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วชิา : Materials Characterization

เนื�อหาวชิา : 516 : Basic Chemical analysis and spectroscopic techniques

ขอ้ที� 1 :
ขอ้ใดไมใ่ช ่application ของสารประกอบเชงิซอ้น

1 : การวเิคราะหป์รมิาณโลหะออิอนดว้ยเทคนคิ Complexometric Titration
2 : การวเิคราะหป์รมิาณโลหะออิอนดว้ยเทคนคิ UV-VIS Spectrometry
3 : การวเิคราะหป์รมิาณโลหะออิอนดว้ยเทคนคิ Atomic Absorption Spectroscopy
4 : การวเิคราะหป์รมิาณโลหะออิอนดว้ยเทคนคิ Colorimetry

ขอ้ที� 2 :
ขอ้ใดไมใ่ชส่มบตัขิองตวัทําละลายสําหรับการแยกสกดัสาร

1 : ตอ้งไมล่ะลายในตวัทําละลายเดมิ
2 : ตอ้งม ีPolarity ใกลเ้คยีงตวัทําละลายเดมิ
3 : ตอ้งเบากวา่ตวัทําละลายเดมิ
4 : ตอ้งมคีวามสามารถในการละลายสารนั�นไดด้กีวา่ตวัทําละลายเดมิ

ขอ้ที� 3 :
ขอ้ใดไมใ่ชส่มบตัขิอง Non-solvent สําหรับการตกตะกอนแยกสาร

1 : ตอ้งละลายในตวัทําละลายเดมิ (Miscible solvents)
2 : ตอ้งเบากวา่ตวัทําละลายเดมิ
3 : ตอ้งม ีPolarity ใกลเ้คยีงตวัทําละลายเดมิ
4 : ตอ้งมคีวามสามารถในการละลายสารนั�นไดน้อ้ยกวา่ตวัทําละลายเดมิ

ขอ้ที� 4 :
กรดไฮโดรคลอรคิมนํี�าหนักโมเลกลุ 36.5 อยากทราบวา่ 1 กรัมสมมลูยห์นักเทา่ไร

1 : 36.5 กรัม
2 : 35.6 กรัม
3 : 73.0 กรัม
4 : 18.25 กรัม

ขอ้ที� 5 :
KMnO4 มนํี�าหนักโมเลกลุ 157.93 อยากทราบวา่ 1 กรัมสมมลูยข์อง KMnO4 ในปฏกิริยิา 2KMnO4
+ 10FeSO4 + 8 H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O มนํี�าหนักเทา่ไร

1 : 157.93 กรัม
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2 : 31.58 กรัม
3 : 15.79 กรัม
4 : 47.38 กรัม

ขอ้ที� 6 :
FeSO4 มนํี�าหนักโมเลกลุ 151.85 อยากทราบวา่ 1 กรัมสมมลูยข์อง FeSO4 ในปฏกิริยิา 2KMnO4 +
10FeSO4 + 8 H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O มนํี�าหนักเทา่ไร

1 : 151.85 กรัม
2 : 303.70 กรัม
3 : 75.92 กรัม
4 : 227.77 กรัม

ขอ้ที� 7 :
Na2C2O4 มนํี�าหนักโมเลกลุ 134.0 อยากทราบวา่ 1 กรัมสมมลูยข์อง Na2C2O4 ในปฏกิริยิา
2KMnO4 + 5Na2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2+ K2SO4 + 8H2O มนํี�าหนักเทา่ไร

1 : 134.0 กรัม
2 : 268.0 กรัม
3 : 67.0 กรัม
4 : 201.0 กรัม

ขอ้ที� 8 :
หาก KMnO4 เกดิปฏกิริยิารดีอกซแ์ลว้ได ้Mn2+ เป็นผลติภณัฑ ์อยากทราบวา่ดา่งทบัทมิ 1 กรัมสม
มลูยม์นํี�าหนักเทา่ไร กําหนดนํ�าหนักโมเลกลุดา่งทบัทมิเทา่กบั 158.04

1 : 158.04 กรัม
2 : 31.61 กรัม
3 : 79.02 กรัม
4 : 15.80 กรัม

ขอ้ที� 9 :
หาก K2Cr2O7 ซึ�งมนํี�าหนักโมเลกลุ 294.21 เกดิปฏกิริยิารดีกัชนัได ้Cr3+ อยากทราบวา่โปแตสเซี
ยมไดโครเมท 1 กรัมสมมลูยห์นักเทา่ไร

1 : 294.21 กรัม
2 : 147.10 กรัม
3 : 98.07 กรัม
4 : 29.42 กรัม

ขอ้ที� 10 :
หาก Na2C2O4 ซึ�งมนํี�าหนักโมเลกลุ 134.0 เกดิปฏกิริยิารดีกัชนัได ้CO2 อยากทราบวา่โซเดยีมออก
ซาเลท 1 กรัมสมมลูยห์นักเทา่ไร

1 : 134.0 กรัม
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2 : 67.0 กรัม
3 : 44.7 กรัม
4 : 13.4 กรัม

ขอ้ที� 11 :
จากปฏกิริยิา K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 อยากทราบ
วา่โปแตสเซยีมไดโครเมท 1 กรัมสมมลูยใ์นปฏกิริยิานี�มนํี�าหนักเทา่ไร กําหนด MW ของ K2Cr2O7 =
294.21

1 : 294.21 กรัม
2 : 147.10 กรัม
3 : 98.07 กรัม
4 : 73.55 กรัม

ขอ้ที� 12 :
จากปฏกิริยิา K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 อยากทราบ
วา่ไฮโดรเจนไดซลัไฟด ์1 กรัมสมมลูยใ์นปฏกิริยิานี�มนํี�าหนักเทา่ไร กําหนด MW ของ H2S = 34.0

1 : 34.0 กรัม
2 : 17.0 กรัม
3 : 5.67 กรัม
4 : 11.33 กรัม

ขอ้ที� 13 :
จากปฏกิริยิา K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 อยากทราบ
วา่ไฮโดรเจนไดซลัไฟด ์1 กรัมสมมลูยใ์นปฏกิริยิานี� มนํี�าหนักเทา่ไร กําหนด MW ของ H2S = 34.0

1 : 34.0 กรัม
2 : 17.0 กรัม
3 : 11.33 กรัม
4 : 5.67 กรัม

ขอ้ที� 14 :
จากปฏกิริยิา K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2S = Cr2(SO4)3 + 7H2O + 3S + K2SO4 อยากทราบ
วา่ K2Cr2O7 1 กรัมสมมลูย ์ในปฏกิริยิานี�มนํี�าหนักเทา่ไร กําหนด MW ของ K2Cr2O7 = 294.21

1 : 294.21 กรัม
2 : 147.10 กรัม
3 : 98.07 กรัม
4 : 73.55 กรัม

ขอ้ที� 15 :
ในการ Standardize หาความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน KMnO4 นยิมใชส้ารประกอบขอ้ใดเป็น
สารสอบเทยีบ
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1 : โซเดยีมออกซาเลตในสารละลายกรด
2 : โซเดยีมออกซาเลตในสารละลายดา่ง
3 : ไอโอดนีในสารละลายกรด
4 : โซเดยีมไธโอซลัเฟต

ขอ้ที� 16 :
ในการ Standardize หาความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานไอโอดนี นยิมใชส้ารประกอบขอ้ใดเป็น
สารสอบเทยีบ

1 : โซเดยีมไธโอซลัเฟตในกรดออ่น
2 : โซเดยีมไธโอซลัเฟตในกรดแก่
3 : โซเดยีมไธโอซลัเฟตในดา่ง
4 : โซเดยีมออกซาเลตในกรดออ่น

ขอ้ที� 17 :
ในการ Standardize หาความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไธโอซลัเฟต นยิมใช ้
สารประกอบขอ้ใดเป็นสารสอบเทยีบ

1 : สารละลายไอโอดนีที�เตรยีมจากเกล็ดไอโอดนีโดยตรง
2 : สารละลายไอโอดนีที�สารละลายไอโอดนีที�ไดจ้าก โลหะทองแดงบรสิทุธิ� ทําปฏกิริยิากบั KI
3 : สารละลายไอโอดนีที�สารละลายไอโอดนีที�ไดจ้ากโลหะเงนิ ทําปฏกิริยิากบั KI
4 : สารละลายไอโอดนีที�สารละลายไอโอดนีที�ไดจ้ากโลหะสงักะส ีทําปฏกิริยิากบั KI

ขอ้ที� 18 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณ Cu ในทองเหลอืง วธิใีดตอ่ไปนี�วเิคราะหไ์มไ่ด้

1 : Electrolysis
2 : Redox Titration
3 : Complexometic Titration
4 : Spectrometric

ขอ้ที� 19 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณ Zn ในทองเหลอืง วธิใีดตอ่ไปนี�วเิคราะหไ์มไ่ด้

1 : Gravimetric
2 : Redox Titration
3 : Spectrometric
4 : Precipitation Titration

ขอ้ที� 20 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณ Pb ในทองเหลอืง วธิใีดตอ่ไปนี�วเิคราะหไ์มไ่ด้

1 : Redox Titration
2 : Complexometric Titration
3 : Gravimetric
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4 : Electrolysis

ขอ้ที� 21 :
หากตอ้งการวเิคราะหห์าปรมิาณตะกั�วในทองเหลอืงดว้ยเทคนคิ การตกตะกอน ควรใชส้ารใดเป็น
precipitant

1 : HCl
2 : H2SO4
3 : CH3COOH
4 : HNO3

ขอ้ที� 22 :
หากตอ้งการวเิคราะหห์าปรมิาณตะกั�วในทองเหลอืงดว้ยเทคนคิ การตกตะกอน เมื�อกรองตะกอนได ้
แลว้ตอ้งทําอยา่งไรกอ่นชั�งนํ�าหนัก

1 : อบที� 110 องศาเซลเซยีส จนนํ�าหนักไมเ่ปลี�ยนแปลง
2 : อบที� 90 องศาเซลเซยีส จนนํ�าหนักไมเ่ปลี�ยนแปลง
3 : อบที� 120 องศาเซลเซยีส จนนํ�าหนักไมเ่ปลี�ยนแปลง
4 : Ignition ที� 900 - 1000 องศาเซลเซยีส จนนํ�าหนักไมเ่ปลี�ยนแปลง

ขอ้ที� 23 :
หากตอ้งการวเิคราะหป์รมิาณตะกั�วในทองเหลอืงดว้ยเทคนคิ Titration ควรใชส้ารใดเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : Methyl Orange
2 : Xylenol Orange
3 : Calcon
4 : Starch-Iodine

ขอ้ที� 24 :
หากตอ้งการวเิคราะหป์รมิาณ Cu ในทองเหลอืง ดว้ยเทคนคิ Titration ควรใชส้ารใดเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : Xylenol Orange
2 : Methyl Orange
3 : Stach-Iodine
4 : Calceine

ขอ้ที� 25 :
หากตอ้งการวเิคราะหป์รมิาณ Sn ในทองเหลอืงดว้ยเทคนคิ Titration ควรใชส้ารใดเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : Xylenol Orange
2 : Starch-Iodine
3 : KMnO4 Self Indicator
4 : Calcon
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ขอ้ที� 26 :
หากตอ้งการวเิคราะหป์รมิาณ Fe ในทองเหลอืง ดว้ยเทคนคิ Titration ควรใชส้ารใดเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : Methyl Orange
2 : Xylenol Orange
3 : KMnO4 Self Indicator
4 : Starch- Iodine

ขอ้ที� 27 :
ขอ้ใดคอืหลกัการคํานวณผลการวเิคราะห ์Redox Titration

1 : 1000 ml 1M Titrant = 1 gram equivalent of element
2 : 1000 ml 1N Titrant = 1 gram equivalent of element
3 : 1000 ml 1M Titrant = 1 gram mole of element
4 : 1000 ml 1N Titrant = 1 gram mole of element

ขอ้ที� 28 :
ขอ้ใดคอืหลกัการคํานวณผลการวเิคราะห ์Complexometric Titration

1 : 1000 ml 1 M Titrant = 1 gram mole of element
2 : 1000 ml 1 N Titrant = 1 gram mole of element
3 : 1000 ml 1 M Titrant = 1 gram equivalent of element
4 : 1000 ml 1 N Titrant = 1 gram equivalent of element

ขอ้ที� 29 :
ในการซื�อขายแมงกานสีไดออกไซดเ์พื�อใชใ้นการผลติแบตเตอรแีบบถา่นไฟฉายดั�งเดมิ ผูซ้ ื�อจะสนใจ
เฉพาะ %MnO2 ไมส่นใจวา่แรนั่�นม ีTotal Mn เทา่ไร อยากทราบวา่ควรวเิคราะหด์ว้ยวธิใีด

1 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปไตเตรตกบัโซเดยีมออกซาเลต
2 : ชั�งแรใ่สบ่กีเกอร ์แลว้ใหทํ้าปฏกิริยิาโดยตรงกบัโซเดยีมออกซาเลตปรมิาณมากเกนิพอ แลว้ไต
เตรตหาโซเดยีมออกซาเลตที�เหลอืดว้ยสารละลายมาตรฐาน KMnO4
3 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปออกซไิดสด์ว้ยโซเดยีมบสิมวิเตตใหอ้ยูใ่นรปูของ Mn7+ แลว้จงึไต
เตรตดว้ยสารละลายมาตรฐาน FeSO4
4 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปไตเตรตกบัโซเดยีมบสิมวิเตต

ขอ้ที� 30 :
ในการซื�อขายแรแ่มงกานสีหากตอ้งการทราบวา่แรนั่�นม ีTotal Mn เทา่ไร ควรวเิคราะหด์ว้ยวธิใีด

1 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปไตเตรตกบัโซเดยีมออกซาเลต
2 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปไตเตรตกบัโซเดยีมบสิมวิเตต
3 : ละลายแร ่กรอง แลว้นําไปออกซไิดสด์ว้ยโซเดยีมบสิมวิเตตใหอ้ยูใ่นรปูของ Mn7+ แลว้จงึไต
เตรตดว้ยสารละลายมาตรฐาน FeSO4
4 : ชั�งแรใ่สบ่กีเกอร ์แลว้ใหทํ้าปฏกิริยิาโดยตรงกบัโซเดยีมออกซาเลตปรมิาณมากเกนิพอ แลว้ไต
เตรตหาโซเดยีมออกซาเลตที�เหลอืดว้ยสารละลายมาตรฐาน KMnO4
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ขอ้ที� 31 :
ขอ้ใดอธบิายการวเิคราะห ์Iodine Methode ไมถ่กูตอ้ง

1 : การวเิคราะหแ์บบ Direct Titration คอื ใชส้ารละลายไอโอดนี เป็นไตแตรนท ์เราสามารถใสนํ่�า
แป้งไดต้ั�งแตต่น้
2 : การวเิคราะหแ์บบ Direct Titration คอื ใชส้ารละลายไอโอดนี เป็นไตแตรนท ์ไมน่ยิมใสนํ่�า
แป้งตั�งแตต่น้
3 : การวเิคราะหแ์บบ Indirect Titration คอื ไอโอดนีเป็นตวัทําปฏกิริยิากบัไตแตรนท ์ไมน่ยิมใส่
นํ�าแป้งตั�งแตต่น้
4 : การวเิคราะหป์รมิาณดบีกุในสารละลายดว้ย Iodine Methode เราสามารถใสนํ่�าแป้งไดต้ั�งแต่
ตน้

ขอ้ที� 32 :
จากคา่ Eo ของปฏกิริยิา MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O;    Fe3+ + 2e- = Fe2+ และ
ปฏกิริยิา   Cl2 + 2e- = 2Cl- เทา่กบั 1.51V; 0.771 V และ 1.36 V ตามลําดบั      ขอ้ใดกลา่วไมถ่กู
ตอ้ง หากไตเตรต    สารละลายเหล็กดว้ย KMnO4 โดยมไิดเ้ตมิ Zimmermann Reagent

1 : Cl2 จะ oxidize Mn2+ เป็น Mn7+
2 : Cl2 จะ reduce Mn7+ เป็น Mn2+
3 : KMnO4 จะ oxidize ทั�ง Cl2 และ Fe2+
4 : สเีหลอืงของ Fe3+ จะรบกวนสขีองจดุยตุิ

ขอ้ที� 33 :
จากคา่ Eo ของปฏกิริยิา MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O และปฏกิริยิา Cl2 + 2e- = 2Cl-
เทา่กบั 1.51 V และ 1.36 V ตามลําดบั จะเกดิอะไรขึ�นหากไตเตรตสารละลายเหล็กดว้ย KMnO4 โดย
มไิดเ้ตมิ Zimmermann Reagent

1 : จะใช ้KMnO4 นอ้ยกวา่ที�ควร เนื�องจาก Cl2 จะ oxidize Mn2+ กลบัเป็น Mn7+
2 : จะใช ้KMnO4 มากกวา่ที�ควร เนื�องจาก Cl2 จะ reduce Mn7+ เป็น Mn2+ ดว้ย
3 : Cl2 ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการไตเตรตนี�
4 : Zimmermann Reagent ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการไตเตรตนี�

ขอ้ที� 34 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณทองแดงในโลหะผสม ควรละลายดว้ยกรดใด

1 : กรดไนตรกิ
2 : กรดไฮโดรคลอรคิ
3 : กรดซลัฟรูคิ
4 : กรดกดัทอง

ขอ้ที� 35 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณ Cu ในแรท่องแดง ควรละลายดว้ยกรดใด

1 : กรดไนตรกิ
2 : กรดไฮโดรคลอรคิ
3 : กรดกดัทอง
4 : กรดซลัฟรูคิ
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ขอ้ที� 36 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณทองแดงในโลหะผสม ดว้ยเทคนคิอเิลคโตรไลซสิ โดยใชส้ารละลายโลหะใน
กรดไนตรกิเป็นอเิลคโทรไลต ์และใช ้Pt เป็นอเิลคโทรด อยากทราบวา่ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง

1 : โลหะทองแดงจะไปสะสมที�ขั�วแคโทด
2 : โลหะทองแดงจะไปสะสมที�ขั�วแอโนด
3 : เกดิกา๊ซ NO2 ที�ขั�วแอโนด
4 : เกดิกา๊ซ O2 ที�ขั�วแคโทด

ขอ้ที� 37 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 N HNO3 ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดไนตรกิเขม้ขน้กี�มลิลลิติร
(ml) กําหนดกรดไนตรกิเขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� HNO3 65% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 63 กรัม/โมล ความ
หนาแน่น 1.4 g/ml

1 : 3.5 ml
2 : 2.2 ml
3 : 3.2 ml
4 : 4.8 ml

ขอ้ที� 38 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 N H2SO4 ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดซลัฟรูคิเขม้ขน้กี�
มลิลลิติร (ml) กําหนดกรดซลัฟรูคิ เขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� H2SO4 70% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 98.08
กรัม/โมล ความหนาแน่น 1.84 g/ml

1 : 3.8 ml
2 : 1.9 ml
3 : 1.3 ml
4 : 2.6 ml

ขอ้ที� 39 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 N HCl ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดไฮโดรคลอรคิเขม้ขน้กี�
มลิลลิติร (ml) กําหนดกรดไฮโดรคลอรคิ เขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� HCl 33% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 36.5
กรัม/โมล ความหนาแน่น 1.2 g/cm3

1 : 5.5 ml
2 : 4.6 ml
3 : 2.3 ml
4 : 1.5 ml

ขอ้ที� 40 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 M H2SO4 ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดซลัฟรูคิเขม้ขน้กี�
มลิลลิติร (ml) กําหนดกรดซลัฟรูคิเขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� H2SO4 70% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 98.08
กรัม/โมล ความหนาแน่น 1.84 g/ml
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1 : 1.9 ml
2 : 3.8 ml
3 : 4.2 ml
4 : 7.6 ml

ขอ้ที� 41 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 M HNO3 ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดไนตรกิเขม้ขน้กี�มลิลลิติร
(ml) กําหนดกรดไนตรกิเขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� HNO3 65% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 63 กรัม/โมล ความ
หนาแน่น 1.4 g/cm3

1 : 3.5 ml
2 : 2.8 ml
3 : 3.2 ml
4 : 4.2 ml

ขอ้ที� 42 :
หากตอ้งการเตรยีมสารละลาย 0.1 M HCl ปรมิาณ 500 ml จะตอ้งใชก้รดไฮโดรคลอรคิเขม้ขน้กี�
มลิลลิติร (ml) กําหนดกรดไฮโดรคลอรคิ เขม้ขน้ มสีมบตัดิงันี� HCl 33% w/w นํ�าหนักโมเลกลุ 36.5
กรัม/โมล ความหนาแน่น 1.2 g/cm3

1 : 4.6 ml
2 : 2.3 ml
3 : 3.2 ml
4 : 6.4 ml

ขอ้ที� 43 :
การวเิคราะหป์รมิาณธาตแุมงกานสีที�เจอืปนอยูใ่นปรมิาณนอ้ยๆ ในสารละลายตวัอยา่ง จํานวน 2
ตวัอยา่ง ควรใชเ้ทคนคิใด

1 : NMR
2 : OES
3 : ICP
4 : AAS

ขอ้ที� 44 :
ขอ้ใดเป็นสว่นประกอบจําเป็นของ Visible-Spectrometer

1 : sodium lamp
2 : x-ray source
3 : tungsten lamp
4 : deuterium lamp

ขอ้ที� 45 :
ขอ้ใดไมใ่ชส่ว่นประกอบของ UV - Vis spectrometer
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1 : nebulizer
2 : light source
3 : monochromator
4 : detector

ขอ้ที� 46 :
ขอ้มลูใดไมถ่กูตอ้ง

1 : AAS เกี�ยวขอ้งกบั absorption process
2 : ICP เกี�ยวขอ้งกบั absorption และ emission process
3 : AAS ม ีselectivity สงูกวา่ ICP
4 : AAS วเิคราะหไ์ดค้รั�งละ 1 ธาตุ

ขอ้ที� 47 :
เปรยีบเทยีบ UV - Vis spectrometer และ AAS ขอ้ใดถกูตอ้ง

1 : AAS เตรยีมตวัอยา่งไดย้ากกวา่
2 : AAS เกี�ยวขอ้งกบัการเปลง่แสงของอะตอม
3 : UV - Vis เกี�ยวขอ้งกบัการเปลง่แสงระดบัโมเลกลุหรอืสารประกอบ
4 : AAS เตรยีมตวัอยา่งไดง้า่ยกวา่

ขอ้ที� 48 :
ขอ้ใดเป็นไปตาม Beer’s law

1 : การดดูกลนืแสงแปรผกผันกบัระยะทางที�แสงผา่น
2 : ความเขม้ขน้ของสารแปรตามปรมิาณการดดูกลนืแสง
3 : การดดูกลนืแสงไมข่ึ�นกบัความยาวคลื�น
4 : การดดูกลนืแสงแปรตามความเขม้ขน้ของสาร

ขอ้ที� 49 :
การวเิคราะหโ์ดย UV - Vis spectrometer จะตอ้งใชส้ารตวัอยา่งที�มลีกัษณะใด

1 : ตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดัตอ้งเป็นของเหลวหรอืแกส๊ที�มสีี
2 : สารตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดัตอ้งเตรยีมเป็น complex ที�มสีเีสมอ
3 : สารตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดัจะตอ้งใส ไมม่ตีะกอนหรอืสารแขวนลอย
4 : สารตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดัตอ้งเป็นของเหลวบรสิทุธิ�เทา่นั�น

ขอ้ที� 50 :
ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการวเิคราะหโ์ดย Visible - spectrometry .

1 : สารละลายตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดั โดยทั�วไปจะมสีี
2 : สารละลายตวัอยา่งที�นํามาเขา้เครื�องวดั จะมสีหีรอืไมม่สีกีไ็ด ้
3 : จะตอ้งใชค้วามยาวคลื�นอยูใ่นชว่ง 200 - 800 nm
4 : จะตอ้งใชค้วามยาวคลื�นอยูใ่นชว่ง 200 - 400 nm
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ขอ้ที� 51 :
ขอ้แตกตา่งระหวา่ง Single beam Instrument และ Double beam Instrument

1 : Double beam Instrument วดั blank และตวัอยา่งในคราวเดยีวกนั แต ่Single beam วดั
blank และตวัอยา่งคนละครั�ง
2 : Single beam Instrument มรีะบบทางเดนิแสงซบัซอ้นกวา่ Double beam Instrument
3 : Single beam Instrument วดัตวัอยา่งไดค้รั�งละ 1 ตวัอยา่ง แต ่Double beam Instrument
วดัตวัอยา่งไดค้รั�งละ 2 ตวัอยา่ง
4 : Single beam Instrument วดั blank และตวัอยา่งในคราวเดยีวกนั แต ่Double beam วดั
blank และตวัอยา่งคนละครั�ง

ขอ้ที� 52 :
ถา้นําสารละลาย A ความเขม้ขน้ 4 ppm (M.W. = 75) ไปวดัคา่ absorbance ที�ความยาวคลื�น 620
nm ไดค้า่ absorbance = 0.394 ระยะทางที�แสงผา่น = 10 mm คา่ absorptivity ของสาร A จะมคีา่
เทา่ไร

1 : 0.0985 litre/(mg-mm)
2 : 0.0985 litre/(mg-cm)
3 : 0.0985
4 : 0.0985 mg/(litre-mm)

ขอ้ที� 53 :
ความแตกตา่งที�ชดัเจนของ FAAS และ ICP คอื

1 : monochromator
2 : light source
3 : read - out device
4 : nebulizer

ขอ้ที� 54 :
ขอ้ใดไมใ่ชส่ว่นประกอบของเครื�อง ICP

1 : monochromator
2 : nebulizer
3 : radio frequency generator
4 : burner

ขอ้ที� 55 :
แกส๊ที�ใชง้านในระบบของเครื�อง ICP คอื

1 : nitrous oxide
2 : acetylene
3 : propane
4 : argon
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ขอ้ที� 56 :
AAS ใชก้บัการวเิคราะหแ์บบใด

1 : Qualitative analysis
2 : Quantitative analyais
3 : Qualitative analysis and Quantitative analyais
4 : Micro analysis

ขอ้ที� 57 :
เครื�องมอืวเิคราะหช์นดิใดที�ตอ้งใชแ้กส๊เชื�อเพลงิ

1 : UV - Vis spectrometer
2 : EDX
3 : FAAS
4 : WDX

ขอ้ที� 58 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิของ Redox Titration

1 : Direct Titration
2 : Back Titration
3 : Indirect Titration
4 : Displacement Titration

ขอ้ที� 59 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิของ Complexometric Titration

1 : Direct Titration
2 : Indirect Titration
3 : Displacement Titration
4 : Back Titration

ขอ้ที� 60 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่งื�อนไขที�จําเป็นสําหรับ Redox Direct Titration

1 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งมเีลขออกซเิดชั�นตั�งแต ่2 คา่ขึ�นไป
2 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งเกดิออกซเิดชั�นไดง้า่ย
3 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งเกดิรดีกัชั�นไดง้า่ย
4 : ตอ้งเกดิปฏกิริยิาเดยีว ณ สภาวะที�ใชใ้นการไตเตรต

ขอ้ที� 61 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่งื�อนไขที�จําเป็นสําหรับ Redox Back titration

1 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งเกดิรดีกัชั�นไดง้า่ย
2 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งเกดิออกซเิดชั�นไดง้า่ย
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3 : ธาตทุี�จะวเิคราะหต์อ้งมเีลขออกซเิดชั�นตั�งแต ่2 คา่ขึ�นไป
4 : ตอ้งเกดิปฏกิริยิาสมบรูณ ์ณ สภาวะที�ใชใ้นการไตเตรต

ขอ้ที� 62 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่งื�อนไขที�จําเป็นสําหรับการวเิคราะหโ์ลหะออิอนดว้ยเทคนคิ Complexometric Titration

1 : โลหะที�จะวเิคราะหต์อ้ง Form Complex กบั Titrant สดัสว่น 1:1 เสมอ
2 : pH เป็นปัจจัยสําคญั ตอ้งเลอืกไตเตรตที� pH เหมาะสม
3 : pH ไมใ่ชปั่จจัยสําคญั จะไตเตรตที� pH ใดกไ็ด ้
4 : Titrant ที�นยิมใชใ้น Complexometric Titration คอื EDTA

ขอ้ที� 63 :
ขอ้ใดอธบิายการไตเตรต Pb2+ ดว้ยเทคนคิ Complexometric ไมถ่กูตอ้ง

1 : เป็น Direct Titration
2 : สารประกอบเชงิซอ้น Pb-EDTA มเีสถยีรภาพสงูกวา่ Pb-Indicator
3 : สารประกอบเชงิซอ้น Pb-EDTA มเีสถยีรภาพตํ�ากวา่ Pb-Indicator
4 : นยิมใช ้Xylenol Orange เป็นอนิดเิคเตอร์

ขอ้ที� 64 :
ในการไตเตรต Pb2+ ดว้ย EDTA และใช ้Xylenol Orange เป็นอนิดเิคเตอร ์หากสารละลาย Pb2+
สารละลาย EDTA และสารละลาย Pb-EDTA ไมม่สี ีขณะที�สารละลาย Xylenol Orange มสีเีหลอืง
และสารละลาย Pb-Xylenol Orange มสีมีว่งแดง อยากทราบวา่ที�จดุยตุมิกีารเปลี�ยนแปลงสอียา่งไร

1 : สเีหลอืง เปลี�ยนเป็น สมีว่งแดง
2 : สมีว่งแดง เปลี�ยนเป็น สเีหลอืง
3 : ไมม่สี ีเปลี�ยนเป็น สเีหลอืง
4 : ไมม่สี ีเปลี�ยนเป็น สมีว่งแดง

ขอ้ที� 65 :
ในการไตเตรต Fe3+ ดว้ย EDTA โดยวธิ ีBack Titration และใช ้Pb2+/Xylenol Orange เป็น
reagents สําหรับการไตเตรตยอ้นกลบั หากสารละลาย Pb2+ สารละลาย EDTA สารละลาย Pb-
EDTA และสารละลาย Fe-EDTA ไมม่สี ีขณะที�สารละลาย Xylenol Orange มสีเีหลอืง และ
สารละลาย Pb-Xylenol Orange มสีมีว่งแดง อยากทราบวา่ที�จดุยตุมิกีารเปลี�ยนแปลงสอียา่งไร

1 : สมีว่งแดง เปลี�ยนเป็น สเีหลอืง
2 : สเีหลอืง เปลี�ยนเป็น สมีว่งแดง
3 : ไมม่สี ีเปลี�ยนเป็น สมีว่งแดง
4 : ไมม่สี ีเปลี�ยนเป็น สเีหลอืง

ขอ้ที� 66 :
ในการไตเตรตหาปรมิาณ Al3+ และ Fe3+ ในสารละลาย Al3+ ซึ�งม ีFe3+ เป็นมลทนิ ดว้ยวธิี
Displacement Complexometric Titration อยากทราบวา่ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้ง

1 : เริ�มตน้ดว้ยการไตเตรตหาปรมิาณ Al3+ + Fe3+ โดยวธิ ีBack Titration
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2 : หาปรมิาณ EDTA ที�ทําปฏกิริยิาพอดกีบั Al3+ โดยการแทนที� EDTA ใน Pb-EDTA ดว้ย NaF
3 : ไตเตรตหาปรมิาณ EDTA ที�ทําปฏกิริยิาพอดกีบั Al3+ โดยใช ้Pb2+/Xylenol Orange
System
4 : ณ จดุยตุจิะมกีารเปลี�ยนแปลงสจีากสมีว่งแดงเป็นสเีหลอืง

ขอ้ที� 67 :
ในการวเิคราะหห์าปรมิาณ Fe3+ ในสารละลายกรด HCl ดว้ย Direct Titration โดยใช ้KMnO4 เป็น
ไตแตรนท ์จะตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent อยากทราบวา่กรณีที�เป็นสารละลาย Fe3+ ในกรด
H2SO4 จะตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent หรอืไม่

1 : ตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent เสมอ ไมว่า่กรณีใดๆ
2 : ไมจํ่าเป็นตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent แตต่อ้งเตมิ H3PO4 2-3 หยดแทน
3 : ไมจํ่าเป็นตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent แตต่อ้งเตมิ H2SO4 2-3 หยดแทน
4 : ไมจํ่าเป็นตอ้งเตมิ Zimmerman Reagent ทําการไตเตรตไดเ้ลย

ขอ้ที� 68 :
ในการวเิคราะห ์Cu2+ ในสารละลายแรห่รอืโลหะทองแดงดว้ยวธิ ีRedox Indirect Titration กอ่นที�
จะเตมิ KI เพื�อใหเ้กดิ I2 นั�น จะตอ้งเตมิ NH4OH เพื�อกําจัด Fe3+ ที�เป็นมลทนิ และปรับ pH กลบัให ้
เป็นกรดออ่นๆ อยากทราบวา่ควรใชอ้นิดเิคเตอรใ์ดในการระบ ุpH ของสารละลาย

1 : pH paper
2 : ไมต่อ้งใชอ้นิดเิคเตอร ์เนื�องจาก Cu2+ ในดา่งมสีนํี�าเงนิ แตจ่ะมสีฟ้ีาในสารละลายกรด จงึเป็น
Self Indication
3 : Phenolpthalien
4 : Methyl Orange

ขอ้ที� 69 :
ในการไตเตรต Fe3+ ดว้ย KMnO4 ควรใชอ้ะไรเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : Methyl Orange
2 : Xylenol Orange
3 : Calcon
4 : ไมต่อ้งใช ้เนื�องจาก KMnO4 เป็น Self Indicator

ขอ้ที� 70 :
ในการวเิคราะหป์รมิาณดบีกุดว้ยวธิ ีRedox Titration โดยใชส้ารละลายไอโอดนีเป็นไตแตรนท ์ควรใช ้
อะไรเป็นอนิดเิคเตอร์

1 : ไมต่อ้งใช ้เนื�องจากไอโอดนีเป็น Self Indication
2 : Starch-Iodine
3 : Xylenol Orange
4 : Calcon

ขอ้ที� 71 :
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ในการวเิคราะหป์รมิาณ Cu2+ ดว้ยวธิ ีIndirect Redox Titration โดยไตเตรตปรมิาณไอโอดนีที�เกดิ
ขึ�นดว้ยสารละลายโซเดยีมไธโอซลัเฟต ควรใชอ้ะไรเป็นอนิดเิคเตอรใ์นการไตเตรต

1 : ไมต่อ้งใช ้เนื�องจากไอโอดนี เป็น Self Indicator
2 : Starch-Iodine
3 : Xylenol Orange
4 : Calcon

ขอ้ที� 72 :
ขอ้ใดไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหห์นิปนู

1 : การหยดกรดลงบนตวัอยา่งหนิแลว้เกดิฟองฟู่  แสดงวา่เป็นแรค่ารบ์อเนต
2 : อบที� 105 องศาเซยีลเซยีส เพื�อหา Moisture Content
3 : อบที� 950 องศาเซยีลเซยีส เพื�อหา Ignition Loss
4 : นยิมละลายดว้ยวธิ ีFusion

ขอ้ที� 73 :
ขอ้ใดไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหด์นิขาว

1 : เตรยีมสารละลาย A (เพื�อหาองคป์ระกอบที�ไมใ่ช ่Alkali) โดยการ Fusion กบั NaOH
2 : เตรยีมสารละลาย B (เพื�อหาองคป์ระกอบ Na และ/หรอื K) โดยเตมิกรด HF ตม้ไลเ่พื�อกําจัด
SiO2 แลว้จงึละลายดว้ยกรดไนตรกิ
3 : วเิคราะห ์TiO2 ดว้ยเทคนคิ UV-VIS Spectroscopy
4 : วเิคราะห ์TiO2 ดว้ยเทคนคิ Redox Titration

ขอ้ที� 74 :
ขอ้ใดไมใ่ชอ่งคป์ระกอบสําคญัของเครื�อง AA

1 : Light Source
2 : Atomizer
3 : Monochromator
4 : Torch

ขอ้ที� 75 :
ขอ้ใดไมใ่ชอ่งคป์ระกอบของ UV-VIS Spectrometer

1 : Light Source
2 : Monochromator
3 : Atomizer
4 : Detector

ขอ้ที� 76 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิการผลติพลาสมาสําหรับ Emission Spectroscopy

1 : Direct Current Plasma
2 : Inductively Coupled Plasma
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3 : Microwave Induced Plasma
4 : Infrared Induced Plasma

ขอ้ที� 77 :
ขอ้ใดอธบิายความเหมอืนหรอืตา่งกนัระหวา่ง UV-VIS Spectroscopy กบั Colorimetry ไมถ่กูตอ้ง

1 : ทั�ง 2 เทคนคิตา่งเป็นการวเิคราะหส์ารโดยอาศยั Interaction ระหวา่ง Light กบั Matter
2 : UV-VIS Spectroscopy ใชว้เิคราะหไ์ดท้ั�งสารละลายมสีแีละไมม่สีี
3 : Colorimetry ใชว้เิคราะหไ์ด ้เฉพาะสารละลายมสีเีทา่นั�น
4 : สารที�ละลายในเบนซนิและดดูกลนืแสงความยาวคลื�น 260 nm นยิมใช ้Sample Cell ที�ผลติ
ดว้ยโพลโีพรไพลนี

ขอ้ที� 78 :
ขอ้ใดไมใ่ช ่Flame ที�นยิมใชใ้นเทคนคิ AAS

1 : Air - Hydrogen
2 : Argon - Nitrous oxide
3 : Air - Acetylene
4 : Nitrous oxide - Acetylene

ขอ้ที� 79 :
AAS เหมาะที�จะใชก้บัการวเิคราะหส์ารประเภทใด

1 : nonmetal cations
2 : alkali metal cations and anions
3 : nonmetal ions and anions
4 : metal cations

ขอ้ที� 80 :
absorption spectra ไดจ้ากการ plot ระหวา่ง

1 : concentration vs. absorbance
2 : wavelength vs. concentration
3 : absorbance vs. wavelength
4 : absorbance vs. transmittance

ขอ้ที� 81 :
การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณดว้ย spectrometric method โดยการทํา calibration curve ถา้ สารละลาย
ของตวัอยา่งที�นําไปวดัคา่ absorbance มคีวามเขม้ขน้สงูกวา่ชว่งที�เป็นเสน้ตรงของ standard
calibration curve ที�เตรยีมไว ้ควรทําอยา่งไร

1 : เปลี�ยนชนดิของ standard ใหม่
2 : เพิ�มความเขม้ขน้ของ standard
3 : extrapolate calibration curve
4 : ลดความเขม้ขน้ของตวัอยา่ง
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ขอ้ที� 82 :
ถา้ตอ้งวเิคราะห ์trace elements หลายชนดิ ในนํ�า พรอ้มๆ กนัและมจํีานวนตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง
ควรใชเ้ทคนคิใด

1 : XRF
2 : UV - Vis
3 : ICP
4 : AAS

ขอ้ที� 83 :
ถา้ absorbance = 0.109 คา่ % transmission จะมคีา่เทา่ใด

1 : 62.1 %
2 : 69.7 %
3 : 71.3 %
4 : 77.81 %

ขอ้ที� 84 :
ถา้ % T = 35.5 คา่ absorbance จะมคีา่เทา่ใด

1 : 0.415
2 : 0.450
3 : 0.685
4 : 0.650

ขอ้ที� 85 :
ขอ้ใดใชห้ลกัการของ atomic emission

1 : XRD
2 : AAS
3 : UV - Vis spectrometry
4 : Flame test

ขอ้ที� 86 :
เมื�อเปรยีบเทยีบวธิทีาง spectroscopy กบัการวเิคราะหแ์บบพื�นฐาน เชน่ การไตเตรท แลว้พบวา่
spectroscopy จะให ้accuracy ตํ�ากวา่ แตม่ ีsensitivity สงูกวา่คําวา่ accuracy หมายถงึ

1 : ความละเอยีด
2 : ความถกูตอ้ง
3 : ความไวตอ่การตรวจวดั
4 : ความแมน่ยํา
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ขอ้ที� 87 :
ขอ้ใดที�ไมใ่ชส่มบตัขิอง Flame atomic absorption spectrometry

1 : matrix effect ตํ�า
2 : เหมาะกบัการทํา Qualitative analysis
3 : เตรยีมตวัอยา่งเพื�อการวเิคราะหไ์ดง้า่ย
4 : high selectivity

ขอ้ที� 88 :
วธิกีารทํา standard addition method คอื

1 : เตรยีม standard 1 คา่ ความเขม้ขน้ แลว้นําไปวดั absorbance เทยีบกบั absorbance ของ
ตวัอยา่ง
2 : เตรยีม standard solution ที�มคีวามเขม้ขน้ตา่งๆ กนั นําไปทํา calibration curve
3 : เตมิ sample ปรมิาณเทา่กนัๆ ลงในชดุ standard ที�เตรยีมไว ้แลว้นําไปวดัคา่ absorbance
เพื�อนําไปทํา calibration curve
4 : เตรยีม sample ไปวดั absorbance เทยีบกบัคา่คงที�ที�เกบ็ใน memory ของเครื�องมอื

ขอ้ที� 89 :
ขอ้มลูใดถกูตอ้ง

1 : คลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าที�มพีลงังานสงู จะมคีวามยาวคลื�นมาก
2 : คลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าที�มคีวามยาวคลื�นตํ�า จะมพีลงังานสงู
3 : คลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าที�มพีลงังานสงู จะมคีวามถี�ตํ�า
4 : พลงังานของคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้าไมส่มัพันธ ์กบัคา่ความถี�

ขอ้ที� 90 :
matrix matching ระหวา่ง standard และ sample เป็นการวเิคราะหโ์ดยวธิใีด

1 : direct measurement
2 : standard addition
3 : standard curve
4 : ใช ้calibration curve

ขอ้ที� 91 :
การเตรยีม standard solution for calibration curve ควรเตรยีมอยา่งนอ้ยกี�ตวั

1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 5

ขอ้ที� 92 :
Nebulizer ในเครื�อง ICP ทําหนา้ที�อะไร

1 : จําแนกความยาวคลื�น
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2 : ทําใหส้ารละลายตวัอยา่งแตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ
3 : ทําใหโ้มเลกลุของสารตวัอยา่งแตกตวัเป็น ion
4 : ชว่ยสลายสารตวัอยา่งใหเ้ป็นไอ

ขอ้ที� 93 :
Interaction ระหวา่ง electromagnetic radiation กบัอะตอม หรอืโมเลกลุของสารไมไ่ดส้ง่ใหเ้กดิผล
ขอ้ใด

1 : Diffraction
2 : Comminution
3 : Absorption
4 : Emission

ขอ้ที� 94 :
nondestructive method หมายถงึ

1 : AES
2 : ICP
3 : AAS
4 : XRF

ขอ้ที� 95 :
finger print technique ใชก้บังานดา้นใด

1 : Qualitative analysis
2 : Quantitative analysis
3 : Relative analysis
4 : Kinetic analysis

ขอ้ที� 96 :
chelate หรอื complexing agent ที�ใชใ้นกระบวนการ colorimetric method หรอื spectrometric
method คอื

1 : KCl
2 : 1, 10-Phenanthroline
3 : EDTA
4 : phenol

ขอ้ที� 97 :
ถา้ตอ้งการเตรยีม standard solution ของ Ti (IV) 2 ppm 50.0 ml โดยเตรยีมจาก standard
solution ของ Ti (IV) 100 ppm จะตอ้งใช ้standard solution ของ Ti (IV) 100 ppm กี� ml

1 : 0.5
2 : 1
3 : 2
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4 : 5

ขอ้ที� 98 :
ถา้ตอ้งการเตรยีม standard solution ของ Ca (II) 8 ppm 100 ml ในสารละลายของกรดไนทรกิ
0.5 % จะตอ้งใช ้standard Ca (II) 250 mg/l กี� ml (Ca = 40)

1 : 3.2
2 : 0.8
3 : 2.5
4 : 8.0

ขอ้ที� 99 :
ถา้ตอ้งการเตรยีมสารละลายมาตรฐานของ Cu (II)ความเขม้ขน้ 10 microgramตอ่ลติร ปรมิาตร 50.0
ml จะตอ้งใชส้ารละลายมาตรฐาน Cu (II) 5 ppm กี� ml

1 : 0.5
2 : 1.00
3 : 0.10
4 : 5.00

ขอ้ที� 100 :
นํ�าหนักสมมลูของ sulphuric acid มคีา่เทา่ใด (S = 32, O = 16))

1 : 98
2 : 49
3 : 82
4 : 196

ขอ้ที� 101 :
นํ�าหนักสมมลูของ nitric acid มคีา่เทา่ใด (N = 14, O = 16)

1 : 63
2 : 36
3 : 126
4 : 31

ขอ้ที� 102 :
กรดชนดิใดเป็น oxidising acid ที�แรงที�สดุ

1 : hydrochloric acid
2 : nitric acid
3 : perchloric acid
4 : sulphuric acid
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ขอ้ที� 103 :
สารละลาย x : กรดเกลอื 10 % เตรยีมจากกรดเกลอืเขม้ขน้ (36 % by wt., 1.2 g/ml) สารละลาย y
: กรดไนทรกิ 10 % เตรยีมจากกรดไนทรกิเขม้ขน้ (72 % by wt, 1.4 g/ml) เมื�อเปรยีบเทยีบ
สารละลาย x และ y ( N=16, Cl=35.5, O=16)

1 : x มคีวามเขม้ขน้ในหน่วย Molar เทา่กบั y
2 : x มคีวามเขม้ขน้ในหน่วย Molar มากกวา่ y
3 : x มคีวามเขม้ขน้ในหน่วย Molar นอ้ยกวา่ y
4 : x มคีวามเขม้ขน้ในหน่วย Normal เทา่กบั y

ขอ้ที� 104 :
เปรยีบเทยีบ qualitative filter paper (A) และ quantitative filter paper (B) ขอ้มลูใดถกูตอ้ง

1 : A เหมาะกบังานวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเทา่นั�น
2 : A เหมาะกบังานวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพเทา่นั�น
3 : B เหมาะกบังานวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพมากกวา่ A
4 : B เหมาะกบังานวเิคราะหท์ั�งเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ

ขอ้ที� 105 :
ชว่งความยาวคลื�นของการวเิคราะหด์ว้ย UV-Vis spectrometer

1 : 200 - 400 nm
2 : 400 - 800 nm
3 : 800 - 1200 nm
4 : 200 - 800 nm

ขอ้ที� 106 :
ชว่งความยาวคลื�นของการวเิคราะหด์ว้ย ultraviolet radiation

1 : 100 - 200 nm
2 : 200 - 400 nm
3 : 200 - 800 nm
4 : 600 - 1200 nm

ขอ้ที� 107 :
ชว่งความยาวคลื�นของการวเิคราะหด์ว้ย AAS

1 : 100 - 200 nm
2 : 200 - 400 nm
3 : 200 - 800 nm
4 : 600 - 1200 nm

ขอ้ที� 108 :
ชว่งความยาวคลื�นของการวเิคราะหด์ว้ย ICP
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1 : 100 - 200 nm
2 : 200 - 400 nm
3 : 200 - 800 nm
4 : 600 - 1200 nm

ขอ้ที� 109 :
เครื�องมอืที�ใหค้วามรอ้นไดถ้งึอณุหภมูสิงูสดุ ประมาณ 200 - 300 degree celcius คอื

1 : electric oven
2 : fume hood
3 : muffle furnace
4 : water bath

ขอ้ที� 110 :
เครื�องมอืที�ใชก้บัการใหค้วามรอ้นไดถ้งึอณุหภมูสิงูสดุ ประมาณ 1000 degree celcius หรอืสงูกวา่
1000 degree celcius คอื

1 : oven
2 : hot plate
3 : muffle furnace
4 : water bath

ขอ้ที� 111 :
เครื�องมอืที�ใชก้บัการใหค้วามรอ้นที�สามารถควบคมุอณุหภมูใิหค้งที� ที�ประมาณ 100 degree celcius
มกัใชเ้พื�อการทํา evaporation ซึ�งอาจมไีอสารที�เป็นอนัตราย

1 : oven
2 : hot plate
3 : muffle furnace
4 : water bath

ขอ้ที� 112 :
เมื�อใชผ้งตวัอยา่งแรห่นัก 1.0324 กรัม นําไปอบที�อณุหภมู ิ100 degree celcius เป็นเวลา 2 ชั�วโมง
นํ�าหนักคงเหลอื 1.0005 กรัม เมื�อใหค้วามรอ้นตอ่ไปถงึ 700 degree celcius นํ�าหนักคงเหลอื
0.9350 กรัม เมื�อผา่นการเผาตอ่ไปที� 1000 degree celcius นํ�าหนักคงเหลอื 0.7555 กรัม ถามวา่
เปอรเ์ซน็ต ์LOI มคีา่เทา่ไร

1 : 24.5
2 : 26.8
3 : 6.5
4 : 9.4

ขอ้ที� 113 :
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วสัดตุวัอยา่ง 0.5110 กรัม นํามาละลายดว้ยกรด แลว้เตรยีมเป็น stock solution 250.0 ml จากนั�นจงึ
นําสารละลายจาก stock solution ไปวเิคราะหป์รมิาณแมกนเีซยีมดว้ยอะตอมมกิแอบซอบชั�น พบวา่
สารละลายนี�มคีวามเขม้ขน้ของแมกนเีซยีม 7.2 ppm ถามวา่วสัดชุนินี�มแีมกนเีซยีมกี�เปอรเ์ซน็ต์

1 : 0.35
2 : 1.41
3 : 0.50
4 : 5.64

ขอ้ที� 114 :
ถา้ตอ้งการเตรยีมสารละลายมาตรฐานของสงักะส ี1000 ppm ปรมิาตร 2.5 ลติร โดยเตรยีมจากโลหะ
สงักะส ีความบรสิทุธิ� 99.9% จะตอ้งชั�งโลหะสงักะสหีนักเทา่ไร

1 : 2.5 กรัม
2 : 2.5000 กรัม
3 : 2.50 กรัม
4 : 2.5025 กรัม

ขอ้ที� 115 :
ถา้ตอ้งการเตรยีมสารละลายมาตรฐานของทองแดง 700 ppm ปรมิาตร 1 ลติร โดยเตรยีมจากผง
copper oxide ซึ�งมคีวามบรสิทุธิ� 97% จะตอ้งชั�งผง copper oxide มาใชเ้ทา่ใด (กําหนดนํ�าหนัก
อะตอม Cu = 63.54, O = 16)

1 : 876.7 mg
2 : 903.5 mg
3 : 700.0 mg
4 : 721.6 mg

ขอ้ที� 116 :
37 % Al คดิเป็น aluminium oxide กี�เปอรเ์ซน็ต ์(Al =27, O = 16)

1 : 95.9
2 : 69.9
3 : 58.9
4 : 47.9

ขอ้ที� 117 :
95 % silica คดิเป็น %Si เทา่ใด

1 : 44.4
2 : 60.5
3 : 2.33
4 : 47.5

ขอ้ที� 118 :
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ตวัอยา่ง 0.5080 กรัม เมื�อนํามาเตรยีมเป็นสารละลาย stock solution 500.0 ml นําไปวเิคราะหพ์บวา่
stock solution มคีวามเขม้ขน้ของ Fe = 0.006 molar ถามวา่ % Fe ในตวัอยา่งมคีา่เทา่ใด (กําหนด
นํ�าหนักอะตอม Fe = 55.85)

1 : 0.3
2 : 0.59
3 : 32.98
4 : 8.7

ขอ้ที� 119 :
electromagnetic wave ที�เรยีงลําดบัตามคา่พลงังานจากนอ้ยไปมาก

1 : UV, VISIBLE , X-RAYS
2 : VISIBLE , UV , X-RAYS
3 : X-RAYS, VISIBLE, UV
4 : X-RAYS , UV, VISIBLE

ขอ้ที� 120 :
electromagnetic wave ที�เรยีงลําดบัตามคา่ความยาวคลื�นจากนอ้ยไปมาก

1 : UV, VISIBLE, X-RAYS
2 : VISIBLE, UV , X-RAYS
3 : X-RAYS, VISIBLE , UV
4 : X-RAYS, UV, VISIBLE

ขอ้ที� 121 :
ขอ้ใดเป็น complexing agent ที�ใชก้บั UV-Vis spectrometry เพื�อการวเิคราะหป์รมิาณฟอสฟอรัส

1 : KCN
2 : vanadomolybdate
3 : EDTA
4 : phenanthroline

ขอ้ที� 122 :
ขอ้ใดไมเ่กี�ยวขอ้งกบัผลที�เกดิจาก interaction ระหวา่ง electromagnetic radiation กบัอะตอมหรอื
โมเลกลุของสสาร

1 : absorption
2 : diffraction
3 : extraction
4 : emission

ขอ้ที� 123 :
โลหะชิ�นหนึ�งหนัก 0.5010 กรัม นํามาละลายดว้ยกรด แลว้เตรยีมเป็น stock solution (A) 250 ml
เมื�อปิเปตสารละลาย A 25.0 ml นําไป reduce ดว้ย stannous chloride กอ่นจะ titrate กบั
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potassium permanganate standard solution ที�มคีวามเขม้ขน้ 0.04 N ปรากฏวา่ตอ้งใช ้standard
solution 20.00 ml เพื�อทําใหป้ฏกิริยิาถงึ end point ถามวา่%Feในโลหะ มคีา่เทา่ใด

1 : 75
2 : 80
3 : 85
4 : 89

ขอ้ที� 124 :
ถา้สารตวัอยา่ง absorb แสงได ้1 % คา่ absorbance ในกรณีนี� จะมคีา่เทา่ไร

1 : 0.01
2 : 0.1
3 : 0.09
4 : 0.004

ขอ้ที� 125 :
light source ที�ใชสํ้าหรับ Ultraviolet radiation ใน spectrometer คอื

1 : deuterium lamp
2 : tungsten lamp
3 : hollow cathode lamp
4 : graphite lamp

ขอ้ที� 126 :
light source ที�ใชสํ้าหรับ visible light ใน spectrometer คอื

1 : deuterium lamp
2 : tungsten lamp
3 : hollow cathode lamp
4 : hollow anode lamp

ขอ้ที� 127 :
ชนดิของ Absorption cell ที�ควรใชก้บัคลื�นแสงในชว่ง 200-400 nm คอื

1 : polyethylene cell
2 : quartz cell
3 : soda-lime glass cell
4 : borosilicate glass cell

ขอ้ที� 128 :
ชนดิของ Absorption cell ที�ควรใชก้บัคลื�นแสงในชว่ง 200-800 nm คอื

1 : polyethylene cell
2 : quartz cell
3 : soft glass cell
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4 : borosilicate glass cell

ขอ้ที� 129 :
ชนดิของ Absorption cell ที�ใชก้บัคลื�นแสง visible คอื

1 : polyethylene cell
2 : graphite cell
3 : borosilicate glass cell
4 : CsBr cell

ขอ้ที� 130 :
AAS ใชว้เิคราะหธ์าตโุดยตรง ในชว่งความเขม้ขน้

1 : 1 - 100 %
2 : 0.1 - 50 ppm
3 : 1 - 100 ppb
4 : 0.1 - 2 %

ขอ้ที� 131 :
FAAS ยอ่มาจาก

1 : Flame analyse atomic spectrometer
2 : Flame atomic analysing spectrometer
3 : Flame atomic absorption spectrometer
4 : Flame absorption atomizer spectrometer

ขอ้ที� 132 :
ICP ใชว้เิคราะหธ์าตโุดยตรงชว่งความเขม้ขน้

1 : 50 ppb – 50 ppm
2 : 1 - 100 ppm
3 : 1 - 100 %
4 : 0.1 - 50 %

ขอ้ที� 133 :
Analytical grade chemicals ตอ้งมคีวามบรสิทุธิ� ไมตํ่�ากวา่เทา่ใด

1 : 99.5 %
2 : 95 %
3 : 99 %
4 : 100 %
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ขอ้ที� 134 :
การนําสารละลายมาตรฐาน “A” ซึ�งเตรยีมขึ�นโดยทราบความเขม้ขน้ อยา่งครา่วๆ นําไป titrate กบั
primary standard solution เพื�อคํานวณหาความเขม้ขน้ของสารละลาย มาตรฐาน “A” นั�น วธิกีารนี�
เรยีกวา่

1 : standard titration
2 : primary titration
3 : secondary titration
4 : Standardization

ขอ้ที� 135 :
gravimetric analysis

1 : การวเิคราะหด์ว้ยการตกตะกอน และชั�งนํ�าหนักตะกอน
2 : การวเิคราะหด์ว้ยการ titrate และดตูะกอนที�เกดิขึ�น
3 : การวเิคราะหด์ว้ยการ titrate และดกูารเปลี�ยนสขีองสารละลาย
4 : การวเิคราะหด์ว้ยการใช ้indicator เพื�อการตกตะกอน

ขอ้ที� 136 :
สารเคมตีวัใดเป็น inorganic precipitant

1 : diethylamine
2 : carbazone
3 : sodium nitrate
4 : ammonium sulphate

ขอ้ที� 137 :
สารเคมตีวัใดเป็น organic precipitant

1 : dimethyl glyoxime
2 : ethanol
3 : EDTA
4 : sodium chloride

ขอ้ที� 138 :
Redox titration คอื

1 : การ titrate โดยดสูทีี�เปลี�ยนแปลงเป็นจดุยตุิ
2 : การ titrate โดยใชห้ลกัการของปฏกิริยิาการถา่ยเทอเิลกตรอนของ reactants
3 : การ titrate โดยใชห้ลกัการทําปฏกิริยิาใหเ้กดิสารประกอบเชงิซอ้น
4 : การ titrate ที�ตอ้งไมม่ตีะกอนเกดิขึ�นในสารละลายระหวา่งทําปฏกิริยิา

ขอ้ที� 139 :
Complexometric titration คอื
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1 : การ titrate โดยการทําปฏกิริยิากบัสารประกอบเชงิซอ้น
2 : การ titrate โดยมสีารประกอบเชงิซอ้นทําหนา้ที�เป็น masking agent
3 : การ titrate โดยใชเ้ครื�องมอืที�ซบัซอ้นเป็นเครื�องชว่ยวดั end point
4 : การ titrate โดยมสีารประกอบเชงิซอ้นเป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา

ขอ้ที� 140 :
primary standard solution

1 : เป็นสารละลายมาตรฐานที�เตรยีมขึ�นโดยทราบปรมิาตรที�แน่ชดั
2 : เป็นสารละลายมาตรฐานที�ตอ้งซื�อจากบรษัิทผูผ้ลติเทา่นั�น
3 : เป็นสารมาตรฐานที�ใชเ้ตรยีม secondary standard substance
4 : เป็นสารละลายมาตรฐานที�เตรยีมขึ�นโดยทราบความเขม้ขน้ที�แน่นอน

ขอ้ที� 141 :
ถา้ตอ้งการเตรยีมสารละลายกรดเกลอื 20 % (by volume) ปรมิาณ 120 ml โดยเตรยีมจากกรดเกลอื
ที�มคีวามเขม้ขน้ 10 M จะตอ้งใชก้รดเกลอื 10 M นี� กี� ml

1 : 10
2 : 12
3 : 24
4 : 20

ขอ้ที� 142 :
กรดไนทรกิเขม้ขน้ที�มป้ีายระบวุา่ 72 % (by wt.) density 1.42 g/ml ปรมิาณ 100 ml จะนําไป
เตรยีมสารละลายกรดไนทรกิ 1.6 M ไดก้ี� ml.

1 : 1000
2 : 2000
3 : 3000
4 : 4000

ขอ้ที� 143 :
การเตรยีมสารละลายกรดเจอืจางจากกรดเขม้ขน้ผสมกบันํ�า ควรทําดงันี�

1 : ตอ้งเตมิกรดเขม้ขน้และนํ�าลงไปผสมพรอ้มๆ กนั
2 : ตอ้งเตมินํ�าลงไปในกรดเขม้ขน้
3 : ตอ้งเตมิกรดเขม้ขน้ลงไปในนํ�า
4 : เตมินํ�าหรอืกรดเขม้ขน้กอ่นกไ็ด ้

ขอ้ที� 144 :
Redox method เหมาะกบัการวเิคราะหธ์าตปุระเภทใด

1 : transition elements ที�ม ีoxidation state มากกวา่ 1 คา่
2 : alkali elements
3 : alkaline earth elements



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 29/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

4 : ธาตทุี�มหีลาย oxidation state และเปลี�ยนแปลง oxidation state ไดง้า่ย

ขอ้ที� 145 :
การกําจัดตวั interfere ที�สลายตวักลายเป็นไอไดง้า่ย เมื�อไดรั้บความรอ้น เรยีกวา่

1 : masking
2 : fusion
3 : digestion
4 : evaporation

ขอ้ที� 146 :
เหตใุดจงีควรใช ้excess precipitant .

1 : เพื�อทดแทนการละลายของ reactant
2 : เพื�อทดแทนการละลายของ precipitant
3 : เพื�อป้องกนัการละลายของ precipitate
4 : เพื�อป้องกนัการละลายของ precipitant

ขอ้ที� 147 :
การใช ้precipitant ดว้ยปรมิาณมากเกนิไป อาจมผีลเสยีทางเทคนคิ คอื

1 : เกดิปฏกิริยิารนุแรง
2 : precipitate อาจเปลี�ยนเป็น soluble complex หรอื soluble salt
3 : precipitate กลายเป็น precipitant
4 : ปฏกิริยิาไมส่ามารถดําเนนิตอ่ไป

ขอ้ที� 148 :
ปัจจัยที�ไมม่ผีลตอ่ความสมบรูณข์องการตกตะกอนคอื

1 : อณุหภมูิ
2 : ระยะเวลาที�ทิ�งใหต้กตะกอน
3 : อตัราเร็วของการเตมิตวัที�ทําใหเ้กดิการตกตะกอน
4 : ภาชนะที�ใช ้

ขอ้ที� 149 :
ถา้ในตวัอยา่งประกอบดว้ยปรมิาณธาตทุี�ตอ้งการวเิคราะหป์ระมาณ 30-40 % ทา่นคดิวา่ควรเลอืก
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณโดยเทคนคิใด

1 : ICP
2 : UV - Vis spectrometry
3 : XRD
4 : Titration
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ขอ้ที� 150 :
analytical technique หรอืเครื�องมอืที�ใชว้เิคราะหต์วัอยา่งที�อยูใ่นสถานะของแข็ง โดยไมต่อ้งสกดัให ้
เป็นสารละลาย

1 : Titration
2 : ICP
3 : AAS
4 : XRD

ขอ้ที� 151 :
ขอ้ใดจัดเป็น Instrumental Analysis

1 : Titrimetry
2 : Optical emission spectroscopy
3 : Gravimetry
4 : Flame test

ขอ้ที� 152 :
อปุกรณใ์ดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการวดัปรมิาตร

1 : volumetric flask
2 : volumetric pipette
3 : graduated cylinder
4 : erlenmeyer flask

ขอ้ที� 153 :
อปุกรณใ์ดที�ไมจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นงาน filtration

1 : spatula
2 : filtering funnel
3 : funnel stand
4 : filter paper

ขอ้ที� 154 :
อปุกรณท์ี�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบั titration process

1 : buret
2 : pipet
3 : volumetric flask
4 : porcelain crucible

ขอ้ที� 155 :
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1 : 0.191
2 : 0.138
3 : 0.094
4 : 0.383

ขอ้ที� 156 :
ชิ�นงานโลหะตวัอยา่งหนัก 0.6630 กรัม นํามา digest เพื�อเตรยีมเป็นstock sample solution (A)
ปรมิาตร 250.0 มล. เมื�อปิเปต (A) มา 5 มล. นําไปใสใ่น volumetric flask ขนาด 50 มล. ปรับ
ปรมิาตรดว้ย 0.5 M nitric acid ได ้solution (B) แลว้นําไปวเิคราะห ์พบวา่ (B) มคีวามเขม้ขน้ของ
ตะกั�ว 1.2 ppm จงคํานวณหาวา่ชิ�นโลหะตวัอยา่งประกอบดว้ยตะกั�วกี�เปอรเ์ซน็ต์

1 : 0.45
2 : 0.91
3 : 0.22
4 : 1.07

ขอ้ที� 157 :
ถา้ม ีsilicon dioxide 5% อยากทราบวา่คดิเป็น silicon ไดเ้ปอรเ์ซน็ต ์( Si = 28.1, O= 16 )

1 : 4.66
2 : 10.73
3 : 2.33
4 : 5.36

ขอ้ที� 158 :
ชั�งตวัอยา่งทราย 0.5010 กรัม ใสใ่น platinum crucible ซึ�งหนัก 20.1230 กรัม เมื�อเตมิHF 5 มล.
และ sulphuric acid 0.5 มล. นําไปใหค้วามรอ้น แลว้ระเหยจนแหง้สนทิ นําไปชั�งนํ�าหนักของ
platinum crucible และ residue พบวา่มนํี�าหนัก 20.1348 กรัม วสัดตุวัอยา่งนี�มเีปอรเ์ซน็ตข์อง silica
เทา่ไร

1 : 97.64
2 : 99.10
3 : 99.58
4 : 98.23

ขอ้ที� 159 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการชั�งวสัดผุง

1 : spatula
2 : analytical balance
3 : stirring rod
4 : weighing paper
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ขอ้ที� 160 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการทํา acid digestion เพื�อการละลายสารตวัอยา่งที�เป็น
ของแข็งใหเ้ป็นสารละลาย

1 : stirring rod
2 : hot plate
3 : beaker
4 : porcelain crucible

ขอ้ที� 161 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหห์าคา่ LOI

1 : platinum crucible
2 : porcelain crucible
3 : graduated cylinder
4 : analytical balance

ขอ้ที� 162 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหค์า่ความชื�นของตวัอยา่งผง

1 : analytical balance
2 : spatula
3 : muffle furnace
4 : electric oven

ขอ้ที� 163 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการเตรยีม primary standard solution จาก primary
standard chemical

1 : volumetric flask
2 : buret
3 : analytical balance
4 : electric oven

ขอ้ที� 164 :
สิ�งใดที�ไมจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นวธิกีารเตรยีม secondary standard solution

1 : analytical reagent
2 : graduated cylinder
3 : beaker
4 : stirring rod

ขอ้ที� 165 :
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UV – VIS spectrophotometry หมายถงึ
1 : ultraviolet - visible spectrophotometry
2 : ultrasonic - visualize spectrophotometry
3 : ultrasonic - visible spectrophotometry
4 : ultrasound - visualize spectrophotometry

ขอ้ที� 166 :
การวเิคราะหป์รมิาณธาตทุองแดงเจอืปนที�มปีรมิาณนอ้ยมาก ระดบั part per billion ในนํ�า ควรใชว้ธิี
ใด

1 : XRD
2 : AAS
3 : ICP
4 : XRF

ขอ้ที� 167 :

1 : 6.2
2 : 6.0
3 : 12.6
4 : 10.2

ขอ้ที� 168 :
คา่Absorbance ที�ไดจ้ากการวดัดว้ย UV-Vis Spectrophotometer จะมคีา่สงูสดุในทางทฤษฎไีด ้
เทา่ใด

1 : 0.1
2 : 1.0
3 : 2.0
4 : 100

ขอ้ที� 169 :

1 : 2 หรอื 3
2 : 2
3 : 3
4 : 4
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ขอ้ที� 170 :

1 : 18.2
2 : 10.5
3 : 20.1
4 : 20.9

ขอ้ที� 171 :
เมื�อละลายชิ�นงานตวัอยา่ง 1.000กรัม แลว้เตรยีมเป็น stock solution “A” 250.0 ml. จากนั�นจงึ
pipet สารละลายจาก “A” นี�มา 20.00 ml ทําใหเ้จอืจางเป็นสารละลาย “B” 50.00 ml กอ่นนําไป
วเิคราะหป์รมิาณแมกนเีซยีมดว้ย AAS พบวา่สารละลาย “B” มแีมกนเีซยีม 10 ppm จงหาคํานวณหา
เปอรเ์ซน็ตแ์มกนเีซยีม ในตวัอยา่งนี�

1 : 0.15
2 : 0.63
3 : 4.63
4 : 4.74

ขอ้ที� 172 :
เมื�อละลายชิ�นงานตวัอยา่ง 0.8100กรัม แลว้เตรยีมเป็น stock solution “A” 250.0 ml. จากนั�นจงึ
pipet สารละลายจาก “A” นี�มา 10.00 ml ทําใหเ้จอืจางเป็นสารละลาย “B” 50.00 ml กอ่นนําไป
วเิคราะหป์รมิาณ titanium พบวา่สารละลาย “B” ม ีtitanium 10 ppm จงหาคํานวณหาเปอรเ์ซน็ต์
titaniumในตวัอยา่งนี�

1 : 1.54
2 : 0.5
3 : 2.57
4 : 0.57

ขอ้ที� 173 :
เมื�อละลายชิ�นงานตวัอยา่ง 1.0350กรัม แลว้เตรยีมเป็น stock solution “A” 250.0 ml. จากนั�นจงึ
pipet สารละลายจาก “A” นี�มา 20.00 ml ทําใหเ้จอืจางเป็นสารละลาย “B” 50.00 ml กอ่นนําไป
วเิคราะหป์รมิาณ titanium พบวา่สารละลาย “B” ม ีtitanium 12 ppm จงหาคํานวณหาเปอรเ์ซน็ต์
titanium dioxideในตวัอยา่งนี� ( Ti=48.9)

1 : 0.9
2 : 1.2
3 : 0.7
4 : 1.8

ขอ้ที� 174 :
ผงแรย่ปิซั�ม 1.0300 กรัม เมื�อผา่นการอบที�อณุหภมู ิ50 องศาเซลเชยีส พบวา่มนํี�าหนักคงเหลอื
1.0260 กรัม เมื�อนําไปอบตอ่ที�อณุหภมู ิ230 องศาเซลเชยีส พบวา่มนํี�าหนักคงเหลอื 0.8315 กรัม
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จากการวเิคราะหโ์ดยวธิศีกึษา combined water จะไดว้า่ตวัอยา่งแรย่ปิซมันี�มคีวามบรสิทุธิ�รอ้ยละ
เทา่ไร ( Ca=40 , S =32 , O=16)

1 : 98.4
2 : 94.8
3 : 92.9
4 : 89.51

ขอ้ที� 175 :
ผงแรย่ปิซั�ม 1.0612 กรัม เมื�อผา่นการอบที�อณุหภมู ิ50 องศาเซลเชยีส พบวา่มนํี�าหนักคงเหลอื
1.0594 กรัม เมื�อนําไปอบตอ่ที�อณุหภมู ิ225 องศาเซลเชยีส พบวา่มนํี�าหนักคงเหลอื 0.8633 กรัม
จากการวเิคราะหโ์ดยวธิศีกึษา combined water จะไดว้า่ตวัอยา่งแรย่ปิซมันี�ม ีcalcium sulphate
รอ้ยละเทา่ไร ( Ca=40 , S =32 , O=16)

1 : 74.8
2 : 87.1
3 : 71.4
4 : 74.1

ขอ้ที� 176 :
มหาสมทุรมพีื�นที�รวม 363 ลา้นตารางกโิลเมตร มคีวามลกึเฉลี�ย 3800 เมตร มคีวามเขม้ขน้เฉลี�ยของ
dissolved gold 5.8 นาโนกรัมตอ่ลติร ถามวา่ในมหาสมทุรจะมทีองอยูท่ั�งหมดเทา่ไร

1 : 8 ลา้น ตนั
2 : 8 ลา้นลา้น ตนั
3 : 80 ลา้น ตนั
4 : 80 ลา้น กโิลกรัม

ขอ้ที� 177 :
ถา้ตอ้งการชั�งวตัถทุี�ตอ้งการความละเอยีดถงึ 0.1 % โดยสิ�งที�ตอ้งการชั�งมนํี�าหนักประมาณ 0.5 กรัม
ควรเลอืกใชเ้ครื�องชั�งชนดิใด

1 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.001 กรัม
2 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.0001 กรัม
3 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.01 กรัม
4 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.1 กรัม

ขอ้ที� 178 :
ถา้ตอ้งการชั�งวตัถโุดยที�ยอมรับความคลาดเคลื�อนของการชั�งได ้0.01 % และสิ�งที�ตอ้งการชั�งมนํี�า
หนักประมาณ 2 กรัม ควรเลอืกใชเ้ครื�องชั�งชนดิใด

1 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 1 ของกรัม
2 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 2 ของกรัม
3 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 3 ของกรัม
4 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 4 ของกรัม
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ขอ้ที� 179 :
ถา้ตอ้งการชั�งวตัถโุดยที�ยอมรับความคลาดเคลื�อนของการชั�งไดถ้งึรอ้ยละ 0.1 และสิ�งที�ตอ้งการชั�งมี
นํ�าหนักประมาณ 120 กรัม ควรเลอืกใชเ้ครื�องชั�งชนดิใด

1 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 2 ของกรัม
2 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 3 ของกรัม
3 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 4 ของกรัม
4 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึทศนยิมตําแหน่งที� 1 ของกรัม

ขอ้ที� 180 :
ถา้ตอ้งการชั�งวตัถทุี�ตอ้งการความละเอยีดถงึ 0.1 % โดยสิ�งที�ตอ้งการชั�งมนํี�าหนักประมาณ 13 กรัม
ควรเลอืกใชเ้ครื�องชั�งชนดิใด

1 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.0001 กรัม
2 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.001 กรัม
3 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.01 กรัม
4 : เครื�องชั�งที�มคีวามละเอยีดถงึ 0.01 มลิลกิรัม

ขอ้ที� 181 :
ถา้เผา calcium carbonate 20.0 กรัม ที�อณุหภมู ิ1000 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง จะมนํี�า
หนักคงเหลอืกี�กรัม (Ca = 40, C = 12, 0 = 16)

1 : 8
2 : 8.8
3 : 11.2
4 : 20.2

ขอ้ที� 182 :
ถา้ใช ้calcium carbonate 13 กรัม นําไปเผาที�อณุหภมู ิ1050 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง จะ
มนํี�าหนักสญูหายไปเทา่ไร (Ca = 40, C = 12, 0 = 16)

1 : 44 %
2 : 56 %
3 : 65 %
4 : 40 %

ขอ้ที� 183 :
ถา้ตอ้งการกําจัดความชื�นจากสารเคมทีี�มนํี�าผลกึ ควรทําอยา่งไร

1 : อบที�อณุหภมู ิ100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง
2 : อบที�อณุหภมู ิ100-110 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง
3 : เกบ็ในเดสกิเคเตอรท์ี�อณุหภมูหิอ้ง
4 : อบที�อณุหภมู ิ150 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชั�วโมง

ขอ้ที� 184 :
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สารเคมทีี�ไมค่วรใชก้บัวสัดทุองคําขาว คอื
1 : sulfuric acid
2 : Hydrofluoric acid
3 : Aqua regia
4 : Hydrochloric acid

ขอ้ที� 185 :
ขอ้ใดเป็นสภาวะการใชง้านที�เป็นอนัตราย สําหรับการใชก้รด Perchloricซี�งเป็น Strong oxidizing
agent

1 : ทําปฏกิริยิากบันํ�าที�อณุหภมูหิอ้ง
2 : ทําปฏกิริยิากบั Strong oxidizing agent
3 : ทําปฏกิริยิากบัเกลอืแกง
4 : ทําปฏกิริยิากบั Strong reducing agent ที�อณุหภมูสิงู

ขอ้ที� 186 :
ขอ้ใดไมต่รงกบัความหมายของ Wet analysis

1 : Classical analysis
2 : Chemical analysis
3 : X-Rays analysis
4 : Assaying

ขอ้ที� 187 :
ละลายลวดทงัสเตน 3.00 กรัม ในสารละลายของกรดกดัทอง แลว้นําไประเหย ตวัทําละลายและสาร
ระเหยออกไป พบวา่ acid-insoluble residue มนํี�าหนักคงเหลอื 0.0950 กรัม หลงัจาก treat ดว้ย HF
พบวา่มนํี�าหนักที�หายไปอกี 20 % ถามวา่ % Si ในลวดทงัสเตนมคีา่เทา่ไร ( Si=28.1, O=16,
W=183.8)

1 : 2 %
2 : 0.2%
3 : 3 %
4 : 0.3 %

ขอ้ที� 188 :
ละลายลวดทงัสเตน 3.00 กรัม ในสารละลายของกรดกดัทอง แลว้นําไประเหยตวัทําละลายและสาร
ระเหยออกไป พบวา่ acid-insoluble residue มนํี�าหนักคงเหลอื 0.0950 กรัมหลงัจาก treat ดว้ย HF
พบวา่มนํี�าหนักที�หายไปอกี 20 % ถามวา่ % W ในลวดทงัสเตนมคีา่ เทา่ไร (W=183.8, O=16)

1 : 2 %
2 : 3 %
3 : 4 %
4 : 5 %
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ขอ้ที� 189 :
การเตรยีม standard solution ของ Cadmium ความเขม้ขน้ 1 ppm. 50.00 ml จาก สารละลาย
standard cadmium solution 1000 ppm ควรเตรยีมดงันี�

1 : pipet สารละลาย 1000 ppm มา 0.005 ml. แลว้ dilute ใหเ้ป็น 50.00 ml.
2 : pipet สารละลาย 1000 ppm มา 0.05 ml. แลว้ dilute ใหเ้ป็น 50.00 ml.
3 : pipet สารละลาย 1000 ppm มา 1.0 ml. แลว้ dilute ใหเ้ป็น 100.00 ml. (A) จากนั�นpipet
(A) มา 5.0 ml. dilute ใหเ้ป็น 50.0 ml.
4 : pipet สารละลาย 1000 ppm มา 5.0 ml. แลว้ dilute ใหเ้ป็น 100.00 ml. (A) จากนั�นจงึ
pipet (A) มา 0.5 ml. dilute ใหเ้ป็น 50.0 ml.

ขอ้ที� 190 :
ถา้ตอ้งการเตรยีม 0.05 M sulphuric acid solution โดยเริ�มตน้จาก Sulphuric acid ปรมิาณ 0.10
mole จะตอ้งใชนํ้�าในการเตรยีมเป็นปรมิาตรเทา่ไร

1 : 10 ml
2 : 100 ml
3 : 200 ml
4 : 2000 ml

ขอ้ที� 191 :
ขอ้ใดที�ไมใ่ชส่มบตัขิอง Analytical grade reagent

1 : High purity (% assay > 99.5)
2 : ระบชุนดิของ Impurities
3 : ระบปุรมิาณของ Impurities
4 : เหมาะกบัการใชเ้ตรยีม Secondary standard solution

ขอ้ที� 192 :
ขอ้ใดเป็นการทํางานของ Masking agent

1 : เป็นตวัเรง่ปฏกิรยิา
2 : เป็นตวัทําใหเ้กดิการตกตะกอน
3 : เป็น Releasing agent เพื�อควบคมุ สภาวะของปฏกิรยิาที�ตอ้งการ
4 : เป็น Complexing agent ที�ใชจั้บตวั Interfere ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ไมร่บกวนปฏกิรยิาที�ตอ้งการ

ขอ้ที� 193 :
Instrumental technique ที�ใชก้บัตวัอยา่งเป็นของแข็งได ้

1 : ICP, AAS spectrometry
2 : XRF, EDX spectrometry
3 : FAAS UV-Vis spectrometry
4 : SEM, UV-Vis spectrometry
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ขอ้ที� 194 :
โดยปกตสิารละลาย Fe3+ ในกรด มสีเีหลอืงออ่น สารละลาย oxine (ในคลอโรฟอรม์) ไมม่สี ีแตเ่มื�อ
เหล็กรวมกบั oxine จะไดส้ารประกอบเชงิซอ้นสเีขยีวเขม้ ทา่นจะเลอืกใชเ้ทคนคิใดในการวเิคราะห์
ปรมิาณ Fe3+ ในสารละลายกรด

1 : Gravimetric
2 : Complexometric
3 : Colorimetric
4 : Potentiometric

ขอ้ที� 195 :
โดยปกตสิารละลาย Fe3+ ในกรด มสีเีหลอืงออ่น (ความยาวคลื�นดดูกลนืสงูสดุ = A) สารละลาย
oxine (ในคลอโรฟอรม์) ไมม่สี ีแตเ่มื�อเหล็กรวมกบั oxine จะไดส้ารประกอบเชงิซอ้นสเีขยีวเขม้
ความยาวคลื�นดดูกลนืสงูสดุ = B) หากทา่นเลอืกใชเ้ทคนคิ UV-VIS spectrometricในการวเิคราะห์
ปรมิาณ Fe3+ ในสารละลายกรด ทา่นจะเลอืกวดัคา่ absorbance ที�ความยาวคลื�นใด

1 : เลอืกใชค้วามยาวคลื�น A
2 : เลอืกใชค้วามยาวคลื�น B
3 : เลอืกใชค้วามยาวคลื�นระหวา่ง A - B
4 : ตอ้งสแกนหาความยาวคลื�นไหม่

ขอ้ที� 196 :
ขอ้ใดเป็นหลกัการพื�นฐานของ UV-VIS spectroscopy

1 : molecular adsorption
2 : molecular absorption
3 : atomic absorption
4 : atomic emission

ขอ้ที� 197 :
ขอ้ใดเป็นหลกัการพื�นฐานของ AA spectroscopy

1 : molecular adsorption
2 : molecular absorption
3 : atomic adsorption
4 : atomic absorption

ขอ้ที� 198 :
ขอ้ใดเป็นหลกัการพื�นฐานของ AE spectroscopy

1 : atomic absorption
2 : atomic adsorption
3 : atomic emission
4 : atomic vibration
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ขอ้ที� 199 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิสําหรับ AAS

1 : Flame atomization
2 : graphite furnace atomization
3 : plasma atomization
4 : non-flame atomization

ขอ้ที� 200 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิสําหรับ AES

1 : Flame exitation
2 : graphite furnace exitation
3 : elctrical (discharge) exitation
4 : plasma exitation

ขอ้ที� 201 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิสําหรับ plasma exitation ใน AES

1 : inductively coupled plasma (ICP)
2 : microwave induced plasma (MIP)
3 : laser induced plasma (LIP)
4 : UV induced plasma (UVIP)

ขอ้ที� 202 :
ขอ้ใดไมใ่ช ่application ของ UV-VIS spectroscopy

1 : photometric tritration
2 : colorimetric tritration
3 : potentiometric tritration
4 : complexometric titration

ขอ้ที� 203 :
หากสาร A เป็นสารไมม่สี ี(ดดูกลนืแสงสงูสดุที� 260 nm) หากนําไปฉายแสงดว้ย High voltage UV
จะเกดิการแตกตวัไดเ้ป็นสาร B (Cation) สเีขยีวเขม้ (ดดูกลนืแสงสงูสดุที� 620 nm) และ OH- ทา่น
จะเลอืกใชเ้ทคนคิใดในการตดิตามการเกดิ Photoreaction นั�น

1 : ใชเ้ทคนคิ AAS วดัคา่ absorbance ของ cation ที�เกดิขึ�น
2 : ใชเ้ทคนคิ ICP วดัคา่ absorbance ของ cation ที�เกดิขึ�น
3 : ใชเ้ทคนคิ UV-VIS วดัคา่ absorbance ของ cation ที�เกดิขึ�น
4 : ใชเ้ทคนคิ IRS วดัคา่ absorbance ของ cation ที�เกดิขึ�น

ขอ้ที� 204 :
ในการวดัความเขม้ขน้สารดว้ยเทคนคิ UV-VIS หากวดัคา่ absorbance แลว้เกนิ 1 มากๆ ทา่นจะ
แกไ้ขอยา่งไร
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1 : เจอืจางสารละลายนั�นไปเรื�อยๆจนคา่ A<1
2 : ใช ้Sample cell หรอื Cuvette ที�ออกแบบพเิศษใหม้ ีpath length นอ้ยลง
3 : เลอืกวดัคา่ absorbance ที�ไมใ่ชค่วามยาวคลื�นสงูสดุ
4 : ใช ้Sample cell หรอื Cuvette ที�ออกแบบพเิศษใหแ้สงผา่นไดน้อ้ยลง

ขอ้ที� 205 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมจํ่าเป็นสําหรับกบัการเตรยีม primary standard solution

1 : Analytical balance
2 : buret
3 : Volumetric flask
4 : Spatula

ขอ้ที� 206 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้ในงานเตรยีม secondary standard solution

1 : balance
2 : Beaker
3 : Spatula
4 : Volumetric flask

ขอ้ที� 207 :
อปุกรณห์รอืเครื�องมอืใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบักระบวนการทํา acid digestion

1 : Beaker
2 : Stirring rod
3 : Spatula
4 : Hot plate

เนื�อหาวชิา : 517 : Materials characterization by X-ray and electron microscopic techniques

ขอ้ที� 208 :
ชิ�นงานที�ไมนํ่าไฟฟ้าสามารถตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning
Electron Microscope)ไดห้รอืไม่

1 : ไมไ่ด ้
2 : ได ้โดยเคลอืบสารนําไฟฟ้า เชน่ ทอง
3 : ได ้โดยเตรยีมชิ�นงานตามปกติ
4 : ได ้โดยตดัชิ�นงานใหบ้างมาก

ขอ้ที� 209 :
ธาตใุดที�ไมส่ามารถตรวจสอบไดด้ว้ย Energy Dispersive Spectrometer (EDS) แบบ Be window

1 : Fe
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2 : Na
3 : Cr
4 : O

ขอ้ที� 210 :
วสัดใุดตอ่ไปนี� ไมส่ามารถตรวจสอบโครงสรา้งของวสัดเุพื�อยนืยนัชนดิของวสัดดุว้ย X-Ray
Diffractometer (XRD)

1 : Al2O3 ที�มโีครงสรา้งแบบ corundum
2 : C ที�มโีครงสรา้งเป็นอะมอฟัส
3 : Fe ที�มโีครงสรา้ง FCC
4 : ไมม่วีสัดชุนดิใดที�ตรวจสอบดว้ยวธินีี�ไมไ่ด ้

ขอ้ที� 211 :
วธิ ีGIXD หรอื GAXD ใชห้ลกัการเหมอืนกบัเครื�องมอืวเิคราะหใ์ด

1 : Scanning Electron Microscope
2 : Transmission Electron Microscope
3 : X-Ray Diffractometer
4 : Atomic Absorption

ขอ้ที� 212 :
วธิใีดไมน่ยิมใชใ้นการตรวจสอบพื�นผวิ

1 : Auger Electron Microscopy
2 : X-Ray Photoelectron Spectrometer
3 : Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
4 : Atomic Absorption

ขอ้ที� 213 :
การตรวจสอบธาตผุสมที�มปีรมิาณนอ้ย ในระดบัหนึ�งในลา้น หรอื part per million (ppm) ควรใชว้ธิี
ใด

1 : Atomic Absorption
2 : X-Ray Diffractometer
3 : X-Ray Fluorescence
4 : Energy Dispersive Spectrometer

ขอ้ที� 214 :
การตรวจสอบวธิใีดไมส่ามารถแสดงผลเป็นภาพถา่ยได ้

1 : Scanning Electron Microscope (SEM)
2 : Transmission Electron Microscope (TEM)
3 : Auger Electron Microscopy (AES)
4 : Energy Dispersive Spectrometer (EDS)
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ขอ้ที� 215 :
การตรวจสอบ Energy Dispersive Spectrometer และ Wavelength Dispersive Spectrometer
ตรวจสอบอะไรจากชิ�นงาน

1 : Auger electron
2 : Secondary electron
3 : Characteristic X-ray
4 : Back scattering electron

ขอ้ที� 216 :
AES ตรวจสอบธาตตุา่งๆดว้ย

1 : Characteristic X-ray
2 : Diffracted X-ray
3 : Transmitted Electron
4 : Auger Electron

ขอ้ที� 217 :
วธิกีารตรวจสอบวธิใีดตอ่ไปนี�ไมส่ามารถตรวจสอบสารประกอบได ้

1 : Energy Dispersive Spectrometer
2 : X-Ray Photoelectron Spectrometer
3 : X-Ray Diffractometer
4 : Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

ขอ้ที� 218 :
คา่ใดตอ่ไปนี�สามารถหาไดโ้ดยตรงจาก electron diffraction pattern

1 : ขนาดของเกรน
2 : พันธะของผลกึ
3 : คา่ขนาดของโครงผลกึ (lattice parameter)
4 : ความหนาของชิ�นงานที�ตรวจสอบ

ขอ้ที� 219 :
Electron Diffraction pattern สามารถตรวจสอบไดจ้ากเครื�องมอืใด

1 : Energy Dispersive Spectrometer
2 : X-Ray Photoelectron Spectrometer
3 : X-Ray Diffractometer
4 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope)
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ขอ้ที� 220 :
เครื�องมอืวเิคราะหใ์ดสามารถถา่ยรปูผวิของรอยแตก (Fracture surface) เพื�อวเิคราะหไ์ด ้

1 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope)
2 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)
3 : กลอ้งจลุทรรศนแ์สง (Optical Microscope)
4 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope) และ
กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)

ขอ้ที� 221 :
ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกี�ยวกบักลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)

1 : ชิ�นงานที�เป็นโลหะจะตอ้งเคลอืบดว้ยคารบ์อนหรอืทองจงึจะใชง้านได ้
2 : สามารถถา่ยรปูรอยแตกไมไ่ดเ้นื�องจากมคีวามชดัลกึตํ�า
3 : ใชลํ้าอเิล็กตรอนในการกระตุน้ใหเ้กดิอเิล็กตรอนทตุยิภมู(ิsecondary electron) เพื�อแสดงภาพ
4 : สามารถวเิคราะหธ์าตไุดท้กุธาตทุี�มเีลขอะตอม มากกวา่หรอืเทา่กบั 2

ขอ้ที� 222 :
ชิ�นงานฉนวนไฟฟ้าเมื�อนําไปถา่ยภาพดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนจะสามารถถา่ยภาพไดห้รอืไม่

1 : สามารถถา่ยภาพไดต้ามปกติ
2 : จะเกดิ Charging ของอเิล็กตรอนทําใหภ้าพสวา่งจา้
3 : จะเกดิ Exciting ทําใหเ้ปลี�ยนแปลงสว่นผสม
4 : จะเกดิ Evaporation ทําใหเ้ปลี�ยนแปลงสว่นผสม

ขอ้ที� 223 :
สว่นที�ทําใหเ้กดิลําอเิล็กตรอนปฐมภมูใินกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอน คอื

1 : ปืนอเิล็กตรอน (electron gun)
2 : เลนสแ์มเ่หล็ก (magnetic len)
3 : วนิโดวท์ี�ทําจากแบรลิเลี�ยม
4 : ชิ�นงาน

ขอ้ที� 224 :
วสัดซุลิกิาที�มโีครงสรา้งแบบอะมอฟัส ตรวจสอบดว้ย X-Ray Diffractometer แลว้ไดผ้ลอยา่งไร

1 : เกดิเป็นพคีตามแบบแฟ้มขอ้มลูมาตรฐานของซลิกิา
2 : ไมป่รากฏพคีที�มมุใดอยา่งชดัเจน
3 : เกดิพคีตามแบบแฟ้มขอ้มลูมาตรฐานของซลิกิา แตพ่คีจะมกีารเลื�อนจากมาตรฐานไปเล็กนอ้ย
4 : ไมส่ามารถบรรจชุ ิ�นงานในเครื�องตรวจสอบได ้

ขอ้ที� 225 :
การคํานวณ lattice parameter จาก ผลการตรวจสอบดว้ย X-Ray Diffractometer ใชห้ลกัการใด

1 : Hall-Petch Relation
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2 : Vegard’s Law
3 : Snell’s Law
4 : Bragg’s Law

ขอ้ที� 226 :
Energy Dispersive Spectrometer ตรวจสอบสารประกอบไดห้รอืไม่

1 : ไมไ่ด ้
2 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มพัีนธะโควาเลนซ์
3 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มโีครงสรา้งผลกึ
4 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มพัีนธะออิอนกิ

ขอ้ที� 227 :
Wavelength Dispersive Spectrometer ตรวจสอบสารประกอบไดห้รอืไม่

1 : ไมไ่ด ้
2 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มพัีนธะโควาเลนซ์
3 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มโีครงสรา้งผลกึ
4 : ได ้เฉพาะสารประกอบที�มพัีนธะออิอนกิ

ขอ้ที� 228 :
Energy Dispersive Spectrometer ตรวจสอบธาตโุดยใชส้ญัญาณจากอะไร

1 : พลงังานของอเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(secondary electron)
2 : ความยาวคลื�นของอเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(secondary electron)
3 : พลงังานของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (characteristic X-ray)
4 : ความยาวคลื�นของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (characteristic X-ray)

ขอ้ที� 229 :
Wavelength Dispersive Spectrometer ตรวจสอบธาตโุดยใชส้ญัญาณจากอะไร

1 : พลงังานของอเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(secondary electron)
2 : ความยาวคลื�นของอเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(secondary electron)
3 : พลงังานของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (characteristic X-ray)
4 : ความยาวคลื�นของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (characteristic X-ray)

ขอ้ที� 230 :
สิ�งใดตอ่ไปนี�ที�ไมเ่กดิขึ�นในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอน

1 : อเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(secondary electron)
2 : Back scattered electron
3 : ออเจอเิล็กตรอน (Auger electron)
4 : โฟโตอเิล็กตรอน (Photo electron)
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ขอ้ที� 231 :
การวเิคราะหด์ว้ย X-Ray Diffractometer สามารถตรวจสอบขนาดของผลกึไดห้รอืไม ่จากอะไร

1 : ไมไ่ด ้
2 : ได ้จากการคํานวณการเลื�อนของพคีตามกฏ Vegard’s law
3 : ได ้จากความกวา้งของพคีที�ครึ�งหนึ�งของความสงู (Full Width Half Max) ตาม Scherrer’s
Formula
4 : ไดใ้นบางกรณี ขึ�นอยูก่บัพันธะของผลกึในวสัดุ

ขอ้ที� 232 :
เมื�อตอ้งการตรวจสอบปรมิาณการละลายของคารบ์อนในเหล็กดว้ย X-Ray Diffractometer สามารถ
ทําไดห้รอืไม่

1 : ไมไ่ด ้
2 : ได ้จากการคํานวณการเลื�อนของพคีตามกฏ Vegard’s law
3 : ได ้จากความกวา้งของพคีที�ครึ�งหนึ�งของความสงู (Full Width Half Max) ตาม Scherrer’s
Formula
4 : ได ้โดยการคํานวณจาก Bragg’s law

ขอ้ที� 233 :
เพราะเหตใุด กลอ้งจลุทรรศนแ์สงจงึนยิมใชแ้สงสเีขยีว

1 : เพราะวา่เป็นแสงที�สามารถทําใหเ้กดิไดง้า่ย
2 : เพราะวา่เป็นแสงที�ใหค้วามถี�ตํ�าทําใหไ้ดภ้าพคมชดั
3 : เพราะวา่เป็นแสงที�มคีวามยาวคลื�นตํ�าทําให ้resolution สงู
4 : เพราะวา่เป็นแสงที�มหีลายความยาวคลื�นทําใหไ้ดภ้าพที�มคีวามชดัลกึ

ขอ้ที� 234 :
เครื�องมอืใดตอ่ไปนี�ถา่ยภาพได ้

1 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอน
2 : Atomic Absorption
3 : X-ray Photoelectron spectrometer
4 : X-ray Diffractometer

ขอ้ที� 235 :
ขอ้มลูใดตอ่ไปนี�ไมส่ามารถไดจ้าก X-ray Diffractometer

1 : โครงสรา้งผลกึ
2 : ชนดิของสารประกอบที�เป็นอะมอฟัส
3 : ขนาดของผลกึ
4 : ปรมิาณของสารแตล่ะชนดิ

ขอ้ที� 236 :
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ขอ้ใดตอ่ไปนี�เป็นจรงิ
1 : X-ray Diffractometer ใชห้าระยะหา่งระหวา่งระนาบตา่งเพื�อหาคา่ขนาดของโครงผลกึและ
บอกชนดิของผลกึได ้
2 : X-ray Diffractometer ใชห้าคา่ขนาดของผลกึได ้
3 : X-ray Diffractometer ใชพ้ลงังานของรังสเีอกซใ์นการบอกชนดิของสาร
4 : X-ray Diffractometer ใชรั้งสเีอกซท์ี�มคีา่ความยาวคลื�นคา่เดยีว

ขอ้ที� 237 :
กลอ้งจลุทรรศนแ์สงสามารถใหกํ้าลงัขยายมากที�สดุเทา่ไร

1 : 10 เทา่
2 : 100 เทา่
3 : 1000 เทา่
4 : 100000 เทา่

ขอ้ที� 238 :
ขอ้จํากดัใดของกลอ้งจลุทรรศนแ์สงถกูตอ้ง

1 : ตรวจสอบขนาดเกรนไมไ่ด ้
2 : ตรวจสอบไดเ้ฉพาะชิ�นงานที�เตรยีมผวิใหเ้รยีบมาแลว้
3 : ตรวจสอบไดเ้ฉพาะชิ�นงานที�นําไฟฟ้าเทา่นั�น
4 : ตรวจสอบไดเ้ฉพาะชิ�นงานที�เป็นโลหะเทา่นั�น

ขอ้ที� 239 :
กลอ้งจลุทรรศนแ์สงที�มกํีาลงัขยายที�เลนสต์า 10 เทา่ เมื�อใชเ้ลนสว์ตัถ ุ50 เทา่จะมกํีาลงัขยายเทา่ใด

1 : 5 เทา่
2 : 40 เทา่
3 : 60 เทา่
4 : 500 เทา่

ขอ้ที� 240 :
ขั�นตอนใดที�ไมต่อ้งทําในการตรวจสอบขนาดชิ�นงานดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์สง

1 : ขดัผวิใหเ้รยีบ
2 : กดักรดหรอืสารเคมทีี�เหมาะสม
3 : ทําใหผ้วิที�จะตรวจสอบไดร้ะนาบ
4 : เคลอืบผวิดว้ยทองหรอืคารบ์อน

ขอ้ที� 241 :
วธิกีารเตรยีมชิ�นงานเพื�อตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์สงและกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนขอ้ใดไมถ่กู
ตอ้ง

1 : ชิ�นงานที�ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์สงตอ้งทําใหผ้วิเรยีบไดร้ะนาบ
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2 : ชิ�นงานที�ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนไมจํ่าเป็นตอ้งทําใหผ้วิเรยีบแตต่อ้งทําใหนํ้า
ไฟฟ้า
3 : ชิ�นงานที�ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์สงและกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนตอ้งกดัผวิดว้ยสาร
ที�เหมาะสมเพื�อใหไ้ดภ้าพที�มคีณุภาพดี
4 : ชิ�นงานที�ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์สงและกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนตอ้งทําใหช้ ิ�นงาน
บางกวา่ 100 ไมโครเมตร

ขอ้ที� 242 :
เทคนดิใดของ X-ray Diffractometer ที�ใชต้รวจสอบชั�นฟิลม์บาง

1 : theta-2theta
2 : GIXD หรอื GAXD
3 : คํานวนจากการตรวจสอบความเคน้เหลอืคา้งในชิ�นงาน
4 : คํานวนจากคา่คงที�ของผลกึ(lattice parameter)ที�เปลี�ยนแปลง

ขอ้ที� 243 :
การเตรยีมตวัอยา่งของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) กบัแบบสอ่งผา่น (TEM) แตก
ตา่งกนัอยา่งไร

1 : ชิ�นงานของ TEM ตอ้งบางมาก
2 : ชิ�นงานของ SEM จะตอ้งบางมาก
3 : เตรยีมชิ�นงานเหมอืนกนั
4 : ชิ�นงานไมจํ่าเป็นตอ้งเตรยีม สามารถตรวจสอบไดเ้ลย

ขอ้ที� 244 :
หลกัการพื�นฐานของการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีXRF คอื ความเขม้ขน้ของ secondary x-ray ขึ�นอยูก่บั

1 : ตวักลางระหวา่ง tube กบัตวัอยา่ง
2 : ความถว่งจําเพาะของตวัอยา่ง
3 : ปรมิาณของธาตใุนตวัอยา่ง
4 : รัศมอีะตอมของธาตใุนตวัอยา่ง

ขอ้ที� 245 :
ในการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีXRF เมื�อใช ้tungsten (W) tube จะไมเ่หมาะสําหรับการวเิคราะหธ์าตุ

1 : Cu
2 : Cu
3 : W
4 : Ca

ขอ้ที� 246 :
การบอกปรมิาณของธาตใุนตวัอยา่งในการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีXRF สามารถทําไดโ้ดย

1 : เทยีบกบัตวัอยา่งมาตรฐาน (standard)
2 : คํานวณไดโ้ดยตรงจากสตูรความเขม้ขน้ของ x-ray
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3 : คํานวณจากสตูรเคมขีองสารประกอบ
4 : การชั�งดว้ยตาชั�ง

ขอ้ที� 247 :
ขอ้ดขีองการวเิคราะหด์ว้ยเครื�อง XRF แบบ energy dispersive (EDX) คอื

1 : สามารถวเิคราะหไ์ดห้ลายธาตพุรอ้มกนั
2 : สามารถวเิคราะหธ์าตทุี�มปีรมิาณตํ�ามาก (ppm) ไดด้ี
3 : ม ีdetection limit ตํ�า
4 : เหมาะสําหรับอยา่งที�มปีรมิาณนอ้ย

ขอ้ที� 248 :
ขอ้ใดที�ไมใ่ช ่x-ray detector

1 : Gas-filled
2 : Scintillation
3 : Geiger counter
4 : Photomultiplier

ขอ้ที� 249 :
องคป์ระกอบใดที�ไมม่ผีลตอ่ matrix effects

1 : Atomic number
2 : Absorption factor
3 : Fluorescence factor
4 : Specific gravity

ขอ้ที� 250 :
ในการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีXRF ผลการวเิคราะหท์ี�ผดิพลาด มกัเกดิจาก

1 : ปรมิาณของตวัอยา่งนอ้ยเกนิไป
2 : ใช ้spectral line ที�ทบัซอ้นกนั
3 : ตวัอยา่งเป็นผงเม็ดละเอยีดมากเกนิไป
4 : ตวัอยา่งเป็นแบบลกูปัด (bead)

ขอ้ที� 251 :
ขอ้ใดที�ไมจํ่าเป็นในการวเิคราะหแ์บบ wavelength dispersive XRF

1 : Analyzing crystal
2 : Multi-channel analyzer
3 : Geiger counter
4 : Photomultiplier
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ขอ้ที� 252 :
ขอ้ใดที�ไมม่ผีลตอ่การวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีXRF

1 : Packing density
2 : Specific gravity
3 : Grain size
4 : Surface roughness

ขอ้ที� 253 :
Auger electrons หมายถงึ

1 : อเิล็กตรอนวงนอกที�หลดุออกมาจากชิ�นงานจากการกระตุน้ของพลงังานที�ไดม้าจากความแตก
ตา่งระหวา่งระดบัพลงังานของอเิล็กตรอนวงในกบัอเิล็กตรอนวงนอก
2 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบไมย่ดืหยุน่ และมพีลงังานตํ�ากวา่ 50 eV
3 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบไมย่ดืหยุน่
4 : อเิล็กตรอนวงในของชิ�นงานที�หลดุออกมาจากการชนของอเิล็กตรอนหรอืโฟตอน

ขอ้ที� 254 :
ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ใชก้ระตุน้ช ิ�นงาน (Incident beam) ในเทคนคิ Auger electron spectroscopy,
AES

1 : Ions
2 : Electrons
3 : X-rays or electrons
4 : Auger electrons

ขอ้ที� 255 :
ขอ้ใดเป็นระดบัสญุญากาศที�ใชใ้นเทคนคิ Auger electron spectroscopy, AES

1 : Low vacuum
2 : Medium vacuum
3 : High vacuum
4 : Ultra high vacuum

ขอ้ที� 256 :
ในการวเิคราะหผ์ลของเทคนคิ Auger electron spectroscopy, AES สมบตัใิดของ Auger electrons
ที�ใชใ้นการวเิคราะหธ์าตุ

1 : Kinetic energy
2 : Wavelength
3 : Diffraction angle
4 : Intensity
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ขอ้ที� 257 :
เทคนคิ Auger electron spectroscopy, AES สามารถวเิคราะหธ์าตตุา่งๆ ได ้ยกเวน้

1 : H, He
2 : ธาตทุี�ม ีAtomic number > 4
3 : ธาตทุี�ม ีAtomic number > 9
4 : ธาตทุี�ม ีAtomic number > 11

ขอ้ที� 258 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนคิวเิคราะหข์อง Auger electron spectroscopy, AES

1 : Line scans
2 : Elemental mapping
3 : Depth profiling
4 : Phase determination

ขอ้ที� 259 :
เหตใุดการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ Auger electron spectroscopy, AES จงึเป็นการวเิคราะหพ์ื�นผวิที�ลกึ
ไมเ่กนิ 2 นาโนเมตรเทา่นั�น

1 : เพราะสภาวะความเป็นสญุญากาศภายใน ทําใหส้ญัญาณที�ไดรั้บลดลง
2 : เพราะพลงังานที�ใชก้ระตุน้ช ิ�นงานตํ�า
3 : เพราะชิ�นงานที�ไดเ้กดิการสะสมประจอุยา่งตอ่เนื�อง
4 : เพราะพลงังานจลนข์อง Auger electrons คอ่นขา้งตํ�า

ขอ้ที� 260 :
ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกี�ยวกบัความหมายของสเปกตรัม “KLL” จากเทคนคิ Auger electron
spectroscopy, AES

1 : K เป็นระดบัพลงังานของอเิล็กตรอน (K shell) ที�มาตกกระทบชิ�นงาน
2 : K เป็นระดบัพลงังานของอเิล็กตรอน (K shell) ที�หลดุออกมาจากชิ�นงานเมื�อถกูกระตุน้โดย
อเิล็กตรอนหรอืโฟตอน
3 : L ตวัที� 2 เป็นระดบัพลงังานของอเิล็กตรอน (L shell) ที�เขา้มาแทนที�อเิล็กตรอนวงใน (K) ที�
หลดุออกไป
4 : L ตวัที� 3 เป็นระดบัพลงังานของอเิล็กตรอน (L shell) ที�หลดุออกมาจากชิ�นงานเมื�อถกูกระตุน้
จากความแตกตา่งระหวา่งพลงังานของอเิล็กตรอนK shell กบั L shell

ขอ้ที� 261 :
การวเิคราะห ์Depth profiling ของชิ�นงานดว้ยเทคนคิ Auger electron spectroscopy, AES ตอ้ง
อาศยัสญัญาณใดกระตุน้

1 : Electrons
2 : Ion beam
3 : Electron and Ion beam
4 : Electron and Photon
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ขอ้ที� 262 :
Photoelectrons หมายถงึ

1 : อเิล็กตรอนวงนอกที�หลดุออกมาจากชิ�นงานจากการกระตุน้ของพลงังานที�ไดม้าจากความแตก
ตา่งระหวา่งระดบัพลงังานของอเิล็กตรอนวงในกบัอเิล็กตรอนวงนอก
2 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบไมย่ดืหยุน่ และมพีลงังานตํ�ากวา่ 50 eV
3 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบไมย่ดืหยุน่
4 : อเิล็กตรอนวงในของชิ�นงานที�หลดุออกมาจากการชนของอเิล็กตรอนหรอืโฟตอน

ขอ้ที� 263 :
ขอ้ใดเป็นเทคนคิที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะห ์Oxidation state ของสนมิเหล็กที�เกดิบนผวิของชิ�น
งาน

1 : XPS หรอืที�เรยีกวา่ ESCA
2 : SEM
3 : EPMA
4 : XRF

ขอ้ที� 264 :
ขอ้ใดเป็นระดบัสญุญากาศที�ใชใ้นเทคนคิ X-ray photoelectron spectroscopy, XPS หรอืที�เรยีกวา่
ESCA

1 : Low vacuum
2 : Medium vacuum
3 : High vacuum
4 : Ultra high vacuum

ขอ้ที� 265 :
ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ใชก้ระตุน้ช ิ�นงาน (Incident beam) ในเทคนคิ X-ray photoelectron
spectroscopy, XPS หรอืที�เรยีกวา่ ESCA

1 : Ions
2 : Electrons
3 : X-rays
4 : Photoelectrons

ขอ้ที� 266 :
ขอ้ใดเป็นขอ้มลูที�ใชใ้นการวเิคราะหช์ ิ�นงาน(Signal) ในเทคนคิ X-ray photoelectron spectroscopy,
XPS หรอืที�เรยีกวา่ ESCA

1 : Ions
2 : Electrons
3 : X-rays
4 : Photoelectrons
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ขอ้ที� 267 :
พลงังานจลนข์อง Photoelectrons ขึ�นอยูก่บัตวัแปรขอ้ใด

1 : พลงังานของ Incident beam ที�มาตกกระทบชิ�นงาน
2 : ระดบัพลงังานจลนข์องอเิล็กตรอนที�ออกมาจากชิ�นงาน
3 : ลกัษณะการชนของ Incident beam บนชิ�นงาน
4 : ถกูทกุขอ้

ขอ้ที� 268 :
ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้ง

1 : Spatial resolution ของ Auger electron microscopy (AES) ดกีวา่ X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS)
2 : Detection limit ของ Auger electron microscopy (AES) ดกีวา่ X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS)
3 : เทคนคิ Auger electron microscopy (AES) และ X-ray photoelectron spectroscopy
(XPS) เป็นการวเิคราะหพ์ื�นผวิของชิ�นงาน
4 : Depth resolution ของ Auger electron microscopy (AES) ดกีวา่ X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS)

ขอ้ที� 269 :
ขอ้ใดเป็นลกัษณะการกระเจงิแบบไมย่ดืหยุน่ (Inelastic scattering) ของอเิล็กตรอนปฐมภมูิ
(Primary electrons) เมื�อตกกระทบชิ�นงาน

1 : อเิล็กตรอนเปลี�ยนทศิทางการเคลื�อนที� แตพ่ลงังานคงที�
2 : อเิล็กตรอนมทีศิทางการเคลื�อนที�และพลงังานคงที�
3 : อเิล็กตรอนเปลี�ยนทศิทางการเคลื�อนที� และพลงังานลดลง
4 : ไมม่ขีอ้ใดถกู

ขอ้ที� 270 :
อเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(Secondary electrons) หมายถงึ

1 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบยดืหยุน่
2 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบไมย่ดืหยุน่ และมพีลงังานตํ�ากวา่ 50 eV
3 : อเิล็กตรอนที�ปลดปลอ่ยจากชิ�นงาน ซึ�งเกดิจากการที�ช ิ�นงานถกูกระตุน้โดยการชนแบบยดืหยุน่
จากอเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons)
4 : อเิล็กตรอนที�ปลดปลอ่ยจากชิ�นงาน และมพีลงังานตํ�ากวา่ 50 eV ซึ�งเกดิจากการที�ช ิ�นงานถกู
กระตุน้โดยการชนแบบไมย่ดืหยุน่จากอเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons)

ขอ้ที� 271 :
ขอ้มลูใดเป็นสญัญาณที�ไดจ้ากอเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(Secondary electrons) ในกลอ้งจลุทรรศน์
อเิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Secondary electron microscope, SEM)

1 : การเรยีงตวัของผลกึ (Crystal orientation)



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 54/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

2 : โครงสรา้งผลกึ (Crystal structure)
3 : สว่นประกอบทางเคม ี(Chemical compositions)
4 : ภาพแสดงลกัษณะพื�นผวิของชิ�นงาน (Topography)

ขอ้ที� 272 :
ขอ้มลูใดเป็นสญัญาณที�ไดจ้ากอเิล็กตรอนกระเจงิกลบั (Backscattered electrons) ใน
กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Secondary electron microscope, SEM)

1 : การเรยีงตวัของผลกึ (Crystal orientation)
2 : โครงสรา้งผลกึ (Crystal structure)
3 : ภาพที�แสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งของธาตตุามเลขอะตอม
4 : ภาพแสดงลกัษณะพื�นผวิของชิ�นงาน (Topography)

ขอ้ที� 273 :
ปัจจัยขอ้ใดที�มผีลตอ่ขนาดของปรมิาตรที�เกดิอนัตรกริยิา (Interaction volume) ในชิ�นงาน เมื�อ
อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ตกกระทบชิ�นงาน

1 : พลงังานของอเิล็กตรอนปฐมภมูิ
2 : ความหนาแน่นของชิ�นงาน
3 : เลขอะตอมของธาตใุนชิ�นงาน
4 : ถกูทกุขอ้

ขอ้ที� 274 :
Sensitivity หรอื Detection limit หมายถงึ

1 : ปรมิาณที�นอ้ยที�สดุของธาตแุตล่ะชนดิในชิ�นงานที�เครื�องมอืสามารถตรวจพบได ้
2 : ความลกึที�สดุจากผวิชิ�นงานที�เครื�องมอืสามารถวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมไีด ้
3 : ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เล็กที�สดุที�เครื�องมอืสามารถวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมไีด ้
4 : จํานวนธาตทุี�มากที�สดุที�เครื�องมอืสามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากชื�นงานในแตล่ะครั�ง

ขอ้ที� 275 :
ขอ้ใดเป็นปัญหาที�เกดิจากการวเิคราะหช์ ิ�นงานที�ไมนํ่าไฟฟ้า (Nonconductive samples) บน
กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Secondary electron microscope, SEM)

1 : ทําใหช้ ิ�นงานเกดิการบดิงอหรอืเปลี�ยนรปูขณะทําการวเิคราะห์
2 : เกดิการสะสมอเิล็กตรอนบนชิ�นงาน ทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่การวเิคราะหห์รอืภาพที�ได ้
3 : ชิ�นงานเกดิการสญูเสยีนํ�า ทําใหผ้ลการวเิคราะหค์ลาดเคลื�อน
4 : ไมเ่กดิปัญหาแตอ่ยา่งใด

ขอ้ที� 276 :
ขอ้ใดไมใ่ชช่นดิของ Electron guns ที�ใชใ้นกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอน SEM และ TEM

1 : Tungsten hairpin
2 : LaB6
3 : Field emission



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 55/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

4 : Wehnelt cup

ขอ้ที� 277 :
อเิล็กตรอนกระเจงิกลบั (Backscattered electrons) หมายถงึ

1 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งานแบบยดืหยุน่
2 : อเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons) ที�ตกกระทบชิ�นงาน และกระเจงิกลบัออกมาจากชิ�น
งาน และเป็นการชนแบบไมย่ดืหยุน่
3 : อเิล็กตรอนที�ปลดปลอ่ยจากชิ�นงาน ซึ�งเกดิจากการที�ช ิ�นงานถกูกระตุน้โดยการชนแบบยดืหยุน่
จากอเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons)
4 : อเิล็กตรอนที�ปลดปลอ่ยจากชิ�นงาน และมพีลงังานตํ�ากวา่ 50 eV ซึ�งเกดิจากการที�ช ิ�นงานถกู
กระตุน้โดยการชนแบบไมย่ดืหยุน่จากอเิล็กตรอนปฐมภมู ิ(Primary electrons)

ขอ้ที� 278 :
กําลงัขยาย (Magnification) ของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Secondary electron
microscope, SEM) ปรับไดโ้ดย

1 : ปรับระยะกวาด (Scan length) ของลําอเิล็กตรอนบนชิ�นงาน
2 : ปรับระยะโฟกสั (Focal length) ของลําอเิล็กตรอน
3 : ปรับความเขม้ของเลนสว์ตัถ ุ(Strength of objective lens)
4 : ปรับกระแสของ Electron gun

ขอ้ที� 279 :
Spot size หรอื Probe size หมายถงึ

1 : ระยะทางที�เล็กที�สดุระหวา่งจดุสองจดุที�สามารถแยกแยะได ้
2 : ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลําอเิล็กตรอนบนชิ�นงาน
3 : ขนาดของจดุบนชิ�นงานที�ถกูแสดงเป็นขอ้มลู 1 จดุบน CRT
4 : ระยะความลกึที�สงูกวา่หรอืตํ�ากวา่ระนาบที�เกดิ Optimum focus แลว้ภาพยงัไมเ่กดิการ
blurring

ขอ้ที� 280 :
Picture element หมายถงึ

1 : ระยะทางที�เล็กที�สดุระหวา่งจดุสองจดุที�สามารถแยกแยะได ้
2 : ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลําอเิล็กตรอนบนชิ�นงาน
3 : ขนาดของจดุบนชิ�นงานที�ถกูแสดงเป็นขอ้มลู 1 จดุบน CRT
4 : ระยะความลกึที�สงูกวา่หรอืตํ�ากวา่ระนาบที�เกดิ Optimum focus แลว้ภาพยงัไมเ่กดิการ
blurring

ขอ้ที� 281 :
Depth of field หมายถงึ

1 : ระยะทางที�เล็กที�สดุระหวา่งจดุสองจดุที�สามารถแยกแยะได ้
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2 : ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลําอเิล็กตรอนบนชิ�นงาน
3 : ขนาดของจดุบนชิ�นงานที�ถกูแสดงเป็นขอ้มลู 1 จดุบน CRT
4 : ระยะความลกึที�สงูกวา่หรอืตํ�ากวา่ระนาบที�เกดิ Optimum focus แลว้ภาพยงัไมเ่กดิการ
blurring

ขอ้ที� 282 :
จากภาพ 2 ภาพดา้นลา่ง ดา้นบนเป็นภาพที�ไดจ้าก Optical Microscope ในขณะที�ดา้นลา่งเป็นภาพ
จาก SEM ใหพ้จิารณาวา่ภาพทั�งสองนี�เป็นการเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นขอ้ไดเ้ปรยีบขอ้ใดของ SEM ที�มี
เหนอืกวา่ Optical microscope 

1 : Resolution
2 : Magnification
3 : Depth of field
4 : Detection limit

ขอ้ที� 283 :
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จากรปูดา้นลา่ง ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ไดม้าจากบรเิวณ (a) 

1 : Auger electrons
2 : Secondary electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Characteristics x-rays

ขอ้ที� 284 :



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 58/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

จากรปูดา้นลา่ง ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ไดม้าจากบรเิวณ (b) 

1 : Auger electrons
2 : Secondary electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Characteristics x-rays

ขอ้ที� 285 :
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จากรปูดา้นลา่ง ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ไดม้าจากบรเิวณ (c) 

1 : Continuous x-rays
2 : Secondary electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Characteristics x-rays

ขอ้ที� 286 :
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จากรปูดา้นลา่ง ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ไดม้าจากบรเิวณ (d) 

1 : Continuous x-rays
2 : Secondary electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Characteristics x-rays

ขอ้ที� 287 :



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 61/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

จากรปูดา้นลา่ง ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ไดม้าจากบรเิวณ (e) 

1 : Continuous x-rays
2 : Secondary electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Characteristics x-rays

ขอ้ที� 288 :
สญัญาณในขอ้ใดจากเทคนคิ Secondary electron microscopy, SEM ที�นําไปใชใ้นการวเิคราะห์
สว่นประกอบทางเคมี

1 : Secondary electrons
2 : Backscattered electrons
3 : Characteristics x-rays
4 : Auger electrons

ขอ้ที� 289 :
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ขอ้ใดเป็น Detector ที�นยิมใชใ้นการวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมขีองเทคนคิ Secondary electron
microscopy, SEM

1 : Energy dispersive spectrometer (EDS)
2 : Everhart-Thornley detector
3 : Scintillator detector
4 : Solid state detector

ขอ้ที� 290 :
ขอ้ใดเป็น Detector ที�นยิมใชใ้นการสรา้งภาพจาก Secondary electrons ของเทคนคิ Secondary
electron microscopy, SEM

1 : Energy dispersive spectrometer (EDS)
2 : Everhart-Thornley detector
3 : Wavelength dispersive spectrometer (WDS)
4 : Solid state detector

ขอ้ที� 291 :
ขอ้ใดเป็น Detector ที�นยิมใชใ้นการสรา้งภาพจาก Backscattered electrons ของเทคนคิ
Secondary electron microscopy, SEM

1 : Energy dispersive spectrometer (EDS)
2 : Everhart-Thornley detector
3 : Wavelength dispersive spectrometer (WDS)
4 : Solid state detector

ขอ้ที� 292 :
กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Secondary electron microscope, SEM) ที�ใชก้นัอยู่
ทั�วไปตอ้งการสภาวะความเป็นสญุญากาศเชน่ใด

1 : Low vacuum pressure
2 : Medium vacuum pressure
3 : High vacuum pressure
4 : Ultra high vacuum pressure

ขอ้ที� 293 :
จดุประสงคห์ลกัของการวเิคราะหโ์ลหะดว้ยเทคนคิ Electron probe microanalyzer (EPMA) คอื

1 : หาสว่นประกอบทางเคมขีองตวัอยา่งโดยวเิคราะหจ์าก Characteristic x-rays ที�ปลดปลอ่ย
ออกมาจากตวัอยา่ง
2 : หาสว่นประกอบทางเคมขีองตวัอยา่งโดยวเิคราะหจ์าก Backscattered electrons ที�สะทอ้น
กลบัออกมาจากตวัอยา่ง
3 : ใชส้ญัญาณ Secondary electrons มาสรา้งภาพ (Image) เพื�อศกึษาขนาดและการกระจายตวั
ของอนุภาคที�มขีนาดเล็ก
4 : ใชว้เิคราะหโ์ครงสรา้งผลกึของตวัอยา่ง
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ขอ้ที� 294 :
ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ใชก้ระตุน้ช ิ�นงาน (Incident beam) ใน EPMA

1 : Scanned electron beam
2 : Monochromatic x-rays
3 : Electron beam
4 : Ions

ขอ้ที� 295 :
การวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมซี ึ�งมปีรมิาตรที�เกดิอนัตรกริยิาขนาดเล็ก (A small interaction
volume) แสดงใหเ้ห็นถงึ

1 : A high spatial resolution
2 : A high sensitivity
3 : A large escape depth
4 : A large penetration depth

ขอ้ที� 296 :
ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ใชใ้นการฟอรม์ภาพ Bright field (BF) ใน TEM

1 : Transmitted electrons
2 : Diffracted electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Secondary electrons

ขอ้ที� 297 :
ขอ้ใดเป็นสญัญาณที�ใชใ้นการฟอรม์ภาพ Dark field (DF) ใน TEM

1 : Transmitted electrons
2 : Diffracted electrons
3 : Backscattered electrons
4 : Secondary electrons

ขอ้ที� 298 :
เทคนคิใดที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมขีองวตัถโุบราณที�มขีนาดประมาณ 5
ไมครอน

1 : XRD
2 : EPMA
3 : TEM
4 : XPS

ขอ้ที� 299 :
เทคนคิใดที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะหห์าขนาดและการกระจายตวัของ CdS nanocrystals
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1 : EPMA
2 : SEM
3 : TEM
4 : AEM

ขอ้ที� 300 :
ขอ้มลูใดไมส่ามารถหาไดจ้าก Bright field (BF) และ Dark field (DF) imaging

1 : Average particle size
2 : Density of second phase particles
3 : Dislocation density
4 : Chemical composition

ขอ้ที� 301 :
เทคนคิใดที�ควรเลอืกใชใ้นการศกึษาลกัษณะ Fracture surface

1 : Optical microscope
2 : SEM
3 : TEM
4 : XRD

ขอ้ที� 302 :
Pump ในขอ้ใดที�เรามกัเลอืกใชก้บัระบบสญุญากาศของ SEM

1 : Diffusion pump
2 : Rotary vane pump และ Diffusion pump
3 : Rotary vane pump และ Ion pump
4 : Diffusion pump และ Ion pump

ขอ้ที� 303 :
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ขอ้ใดเป็น Image ที�ไดจ้ากการฟอรม์ภาพของ TEM ในรปูดา้นลา่ง

1 : Bright field image
2 : Dark field image
3 : Secondary electron image
4 : Backscattered electron image

ขอ้ที� 304 :
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ขอ้ใดเป็น Image ที�ไดจ้ากการฟอรม์ภาพของ TEM ในรปูดา้นลา่ง

1 : Bright field image
2 : Dark field image
3 : Secondary electron image
4 : Backscattered electron image

ขอ้ที� 305 :
ขอ้ใดเป็น X-ray microanalyzer ที�ตดิตั�งบน EPMA ซึ�งทําใหก้ารวเิคราะหส์ว่นประกอบทางเคมขีอง
EPMA เหนอืกวา่ SEM

1 : Energy dispersive x-ray detector (EDS)
2 : Everhart-Thornley detector
3 : Wavelength dispersive spectrometer (WDS)
4 : Solid state detector

ขอ้ที� 306 :
ขอ้ใดเปรยีบเทยีบระหวา่ง WDS และ EDS ไดไ้มถ่กูตอ้ง

1 : Energy resolution ของ WDS ดกีวา่ EDS
2 : Sensitivity ของ WDS ดกีวา่ EDS
3 : Analysis time ของ WDS เร็วกวา่ EDS
4 : Peak-to-background ratio ของ WDS ดกีวา่ EDS
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ขอ้ที� 307 :
ทําไม Electron microscope จงึม ีResolution ที�ดกีวา่ Optical microscope

1 : เพราะเลนสท์ี�ใชใ้น Electron microscope เป็น Electromagnetic lens
2 : เพราะ Electron microscope มจํีานวนเลนสม์ากกวา่ใน Optical microscope
3 : เพราะ Electrons ใน Electron microscope มคีวามยาวคลื�นสั�นกวา่ Photons ใน Optical
microscope
4 : เพราะราคาของ Electron microscope แพงกวา่ Optical microscope

ขอ้ที� 308 :
ขอ้มลู Spots diffraction patterns จาก TEM นําไปใชป้ระโยชนใ์นการวเิคราะห์

1 : Crystal phases
2 : Crystal structure
3 : Crystal orientation
4 : ถกูทกุขอ้

ขอ้ที� 309 :
ขอ้ใดเป็นตวักําหนด Resolution ใน TEM

1 : Accelerating voltage
2 : Magnification
3 : Working distance
4 : Depth of focus

ขอ้ที� 310 :
ขอ้ใดที�เป็นขอบเขตความสามารถในการวเิคราะหข์อง TEM ที�เหนอืกวา่ SEM

1 : Electron Diffraction patterns
2 : Atomic structure
3 : Crystal orientation
4 : ถกูทกุขอ้

ขอ้ที� 311 :
ภายใตส้ภาวะที�กําหนด ขอ้ใดม ีResolution ดทีี�สดุ

1 : 100 keV accelerating voltage
2 : 100 k magnification
3 : 200 keV accelerating voltage
4 : 200 k magnification

ขอ้ที� 312 :
เลนสต์วัใดบน TEM ที�ใชโ้ฟกสัลําอเิล็กตรอนลงบนชิ�นงานตามตําแหน่งที�ตอ้งการ

1 : Objective lens
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2 : Condenser lens
3 : Intermediate lens
4 : Projector lens

ขอ้ที� 313 :
ขอ้ใดเป็นแลททซิพารามเิตอรข์องโลหะ BCC เกรนเดี�ยวชนดิหนึ�งที�มกีารเรยีงตวัในระนาบ (110) เมื�อ
ผลการวเิคราะหโ์ดยเทคนคิ XRD ที�ใชรั้งส ีx-rays ความยาวคลื�น 1.790 องัสตรอมปรากฏสญัญาณ
(Peak) ขึ�นที�มมุ 2Theta เทา่กบั 52.05 องศา

1 : 3.152 องัสตรอม
2 : 2.885 องัสตรอม
3 : 4.078 องัสตรอม
4 : 2.986 องัสตรอม

ขอ้ที� 314 :
Characteristics X-rays เกดิจากขอ้ใด

1 : พลงังานที�ปลดปลอ่ยจากอะตอมในรปูของรังส ีX-rays เมื�ออเิล็กตรอนชั�นนอกของอะตอมถกู
กระตุน้ใหห้ลดุออกจากอะตอม
2 : พลงังานที�ปลดปลอ่ยจากอะตอมในรปูของรังส ีX-rays เมื�ออะตอมไดรั้บความรอ้น
3 : พลงังานที�ปลดปลอ่ยจากอะตอมในรปูของรังส ีX-rays จากการที�อเิล็กตรอนปฐมภมูเิปลี�ยน
ทศิทางการเคลื�อนที�
4 : พลงังานที�ปลดปลอ่ยจากอะตอมในรปูของรังส ีX-rays จากการที�อเิล็กตรอนชั�นในของอะตอม
ถกูกระตุน้ใหห้ลดุออกไปและอเิล็กตรอนวงถดัไปเขา้มาแทนที�

ขอ้ที� 315 :
เมื�ออเิล็กตรอนวงในของอะตอมถกูกระตุน้ใหห้ลดุออกไป ทําใหอ้ะตอมอยูใ่นสภาวะ Excitation การ
คนืสภาพหรอืลดพลงังานของอะตอมสูส่ภาวะปกต ิทําไดโ้ดยการปลดปลอ่ยพลงังานในรปูใดบา้ง

1 : Auger electron, Characteristics x-ray, Cathodoluminescence
2 : Auger electron, Continuous x-rays, Cathodoluminescence
3 : Auger electron, Characteristics x-ray, Continuous x-rays, Cathodoluminescence
4 : Characteristics x-ray, Continuous x-rays, Cathodoluminescence

ขอ้ที� 316 :
ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกี�ยวกบัเทคนคิ XRD

1 : รังส ีX-ray ที�ใชเ้ป็นรังสทีี�มคีวามยาวคลื�นคา่เดยีว (Monochromatic x-ray)
2 : ผลจากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นปรมิาณของธาตแุตล่ะชนดิที�มอียูใ่นตวัอยา่ง
3 : ตวัอยา่งที�วเิคราะหต์อ้งเป็นผลกึ
4 : การสะทอ้นของรังส ีX-ray เป็นไปตามกฎของแบรกส ์(Bragg’s law)

ขอ้ที� 317 :
ขอ้มลูดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็นระดบัพลงังานอเิล็กตรอนของโลหะ Erbium, Hafnium, Tantalum และ
Tungsten ใหห้าวา่ Characteristic x-ray ของธาตใุดมพีลงังานเทา่กบั 55,752 eV 
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1 : Erbium
2 : Hafnium
3 : Tantalum
4 : Tungsten

ขอ้ที� 318 :
ขอ้ใดเป็นพลงังานของ x-ray จากโลหะทงัสเตน (Tungsten) กําหนดใหร้ะดบัพลงังานอเิล็กตรอน
ของโลหะ Tungsten เป็นดงันี� K shell = -69,510 eV , L shell = -10,200 eV และ M shell =
-1,814 eV

1 : 67,696 eV
2 : 59,310 eV
3 : 57,496 eV
4 : 8,386 eV

ขอ้ที� 319 :
ขอ้ใดเป็นพลงังานของ K-alpha x-ray จากโลหะทงัสเตน (Tungsten) กําหนดใหร้ะดบัพลงังาน
อเิล็กตรอนของโลหะ Tungsten เป็นดงันี� K shell = -69,510 eV , L shell = -10,200 eV และ M
shell = -1,814 eV

1 : 67,696 eV
2 : 59,310 eV
3 : 57,496 eV
4 : 8,386 eV

ขอ้ที� 320 :
ขอ้ใดเป็นพลงังานของ K-beta x-ray จากโลหะทงัสเตน (Tungsten) กําหนดใหร้ะดบัพลงังาน
อเิล็กตรอนของโลหะ Tungsten เป็นดงันี� K shell = -69,510 eV , L shell = -10,200 eV และ M
shell = -1,814 eV

1 : 67,696 eV
2 : 59,310 eV
3 : 57,496 eV
4 : 8,386 eV
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ขอ้ที� 321 :
ขอ้มลูที�ใชใ้นการวเิคราะหต์วัอยา่ง (Information signals) ในเทคนคิ XRD คอื

1 : Secondary x-ray
2 : Diffracted x-ray
3 : Continuous x-ray
4 : Back reflected x-ray

ขอ้ที� 322 :
ขอ้ใดเป็นสภาวะสญุญากาศใน XRD

1 : No vacuum
2 : Low vacuum
3 : Medium vacuum
4 : High vacuum

ขอ้ที� 323 :
ขอ้ใดเป็นพลงังานของ K-alpha x-ray จาก Tungsten กําหนดใหร้ะดบัพลงังานอเิล็กตรอนของโลหะ
ดบีกุ (Tin) เป็นดงันี� K shell = -29,199 eV , L shell = -3,929 eV และ M shell = -709 eV

1 : 28,490
2 : 25,270
3 : 24,561
4 : 3,220

ขอ้ที� 324 :
Characteristic x-ray ที�มพีลงังาน 10,553 eV จากโลหะตะกั�ว (Lead) เป็น X-ray แบบใด กําหนดให ้
ระดบัพลงังานอเิล็กตรอน K shell = -88,018 eV , L shell = -13,773 eV และ M shell = -3,220
eV

1 : K-alpha
2 : K-beta
3 : L-alpha
4 : L-beta

ขอ้ที� 325 :
X-ray tube เป็นหลอดกําเนดิสญัญาณ X-ray ที�ใชใ้นเทคนคิ XRD โดยอาศยัการชนของอนุภาคขอ้
ใดบนโลหะหนักแลว้กอ่ใหเ้กดิ X-ray จากโลหะหนักขึ�น

1 : Photon
2 : Electron
3 : Ion
4 : Microwave
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ขอ้ที� 326 :
ในการวเิคราะหผ์ลของเทคนคิ XRD ตอ้งอาศยักฎของแบรกส ์(Bragg’s law) ใหพ้จิารณาวา่ตวัแปร
ขอ้ใดเป็นตวัแปรที�ไมท่ราบคา่กอ่นการวเิคราะห์

1 : ไมม่ี
2 : ความยาวคลื�น
3 : d-spacing
4 : มมุ Theta

ขอ้ที� 327 :
ขอ้ใดเป็นเทคนคิที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะห ์Crystalline phases ในวสัดเุซรามกิส์

1 : XRF
2 : XRD
3 : EPMA
4 : XPS

ขอ้ที� 328 :
ขอ้ใดเป็นเทคนคิที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะหธ์าตทุี�ประกอบของเม็ดส ี(Pigments) ในสี

1 : XRF
2 : XPS
3 : XRD
4 : EPMA

ขอ้ที� 329 :
สญัญาณ (Incident beam) ที�ใชใ้นการกระตุน้ตวัอยา่งในเทคนคิ XRF คอื

1 : Monochromatic x-ray
2 : White x-ray
3 : Electrons
4 : Ions

ขอ้ที� 330 :
ขอ้มลูที�ใชใ้นการวเิคราะหต์วัอยา่ง (Information signals) ในเทคนคิ XRF คอื

1 : Secondary x-ray
2 : Diffracted x-ray
3 : Continuous x-ray
4 : Back reflected x-ray

ขอ้ที� 331 :
ในการวเิคราะหผ์ลของ WDS ตอ้งอาศยักฎของแบรกส ์(Bragg’s law) ใหพ้จิารณาวา่ตวัแปรขอ้ใด
เป็นตวัแปรที�ไมท่ราบคา่กอ่นการวเิคราะห์
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1 : ไมม่ี
2 : ความยาวคลื�น
3 : d-spacing
4 : มมุ Theta

ขอ้ที� 332 :
ขอ้ใดเป็นเทคนคิที�ควรเลอืกใชใ้นการวเิคราะห ์Bulk elemental analysis ของซปุเปอรอ์ลัลอย

1 : XRD
2 : XRF
3 : SEM
4 : TEM

ขอ้ที� 333 :
ขอ้ใดไมใ่ช ่Detector ที�ใชใ้น XRD

1 : Gas-filled counter
2 : Scintillation counter
3 : Semiconductor counter
4 : Energy dispersive spectrometer

ขอ้ที� 334 :
ขอ้ใดเป็น Detector ที�ใชใ้น XRF

1 : Gas-filled counter
2 : Scintillation counter
3 : Semiconductor counter
4 : Wavelength dispersive spectrometer

ขอ้ที� 335 :
Powder X-ray Diffractometer เครื�องหนึ�งสามารถเกบ็ขอ้มลูในชว่งมมุ Theta เทา่กบั 2.5-75 องศา
ถา้ตอ้งการวเิคราะหเ์ฟสที�ม ีd-spacing เทา่กบั 0.65 องัสตรอม ควรใชห้ลอด X-ray แบบใด

1 : Cu-tube (K-alpha = 1.54 องัสตรอม)
2 : Cr-tube (K-alpha = 2.29 องัสตรอม)
3 : Mo-tube (K-alpha = 0.709 องัสตรอม)
4 : Co-tube ((K-alpha = 1.789 องัสตรอม)

ขอ้ที� 336 :
ผลการวเิคราะหจ์ากเทคนคิ XRD อยูใ่นรปูของ

1 : Intensity v.s. 2Theta
2 : Intensity v.s. Energy
3 : Intensity v.s. Wavelength
4 : Energy v.s. 2Theta
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ขอ้ที� 337 :
ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกี�ยวกบัเทคนคิ XRF

1 : สามารถนํามาวเิคราะหธ์าตขุองอนุภาคขนาด 10 ไมครอน
2 : สามารถวเิคราะหต์วัอยา่งที�เป็นของเหลว
3 : สามารถวเิคราะหธ์าตทุี�มเีลขอะตอม > 9
4 : Detector ที�ใชเ้ป็น EDS หรอื WDS

ขอ้ที� 338 :
ผลการวเิคราะหจ์าก EDS อยูใ่นรปูของ

1 : Intensity v.s. 2Theta
2 : Intensity v.s. Energy
3 : Intensity v.s. Wavelength
4 : Energy v.s. 2Theta

ขอ้ที� 339 :
ผลการวเิคราะหจ์าก WDS อยูใ่นรปูของ

1 : Intensity v.s. 2Theta
2 : Wavelength v.s. Energy
3 : Intensity v.s. Wavelength
4 : Wavelength v.s. 2Theta

ขอ้ที� 340 :
Powder X-ray Diffractometer เครื�องหนึ�งสามารถเกบ็ขอ้มลูในชว่งมมุ Theta = 2.5-75 องศา ถา้
ตอ้งการวเิคราะหเ์ฟสที�ม ีd-spacing เทา่กบั 22 องัสตรอมควรใชห้ลอด X-ray แบบใด

1 : Cu-tube (K-alpha = 1.54 องัสตรอม)
2 : Cr-tube (K-alpha = 2.29 องัสตรอม)
3 : Mo-tube (K-alpha = 0.709องัสตรอม)
4 : Co-tube (K-alpha = 1.789 องัสตรอม)

ขอ้ที� 341 :
เครื�อง Optical Emission Spectrometer แบบ Spark source โดยทั�วไปไมใ่ชสํ้าหรับวเิคราะหห์า
ปรมิาณธาตใุนโลหะกลุม่ใด

1 : โลหะกลุม่เหล็ก (Fe base)
2 : โลหะกลุม่ทองแดง (Cu base)
3 : โลหะกลุม่อลมูเินยีม (Al base)
4 : โลหะบดักร ี(โลหะผสมตะกั�ว-ดบีกุ)
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ขอ้ที� 342 :
ขอ้ใดเป็นขอ้จํากดัของชิ�นงานตวัอยา่ง (sample) สําหรับเครื�อง OEM แบบ spark source

1 : ชิ�นงานตวัอยา่งตอ้งเป็นของแข็งที�นําไฟฟ้าได ้
2 : ชิ�นงานตวัอยา่งตอ้งเป็นฉนวนไฟฟ้า
3 : ชิ�นงานตวัอยา่งตอ้งเป็นของเหลว
4 : ชิ�นงานตวัอยา่งตอ้งมลีกัษณะเป็นผง

ขอ้ที� 343 :
เครื�อง OEM แบบ Spark Source ไมเ่หมาะกบัการประยกุตใ์ชง้านในดา้นใด

1 : อตุสาหกรรมดา้นการหลอ่เหล็ก และผลติเหล็กกลา้
2 : การตรวจสอบวตัถดุบิ (โลหะผสมอลมูเินยีม) ที�จะนํามาขึ�นรปู(extrusion)เป็นผลติภณัฑ์
3 : การวเิคราะหห์าปรมิาณ SiC dispersion ในวสัดผุสม Aluminum-SiC
4 : การวเิคราะหห์าธาตเุจอืในโลหะผสมทองแดง

ขอ้ที� 344 :
ขอ้ใด ไมใ่ช ่ชนดิของ Emission Source ในเครื�อง OEM

1 : High-voltage sparks
2 : Induction furnace
3 : Flame
4 : Glow discharge

ขอ้ที� 345 :
ภาวะที�อะตอมของธาตไุดรั้บพลงังาน จงึทําให ้electron ขยบัไปสูว่งนอก (ชั�นถดัไป) มชีื�อเรยีกวา่
อยา่งไร

1 : Excited state
2 : Ground state
3 : Normal state
4 : Abnormal state

ขอ้ที� 346 :
ขอ้ใด ไมใ่ช ่สว่นประกอบโดยทั�วไปของเครื�อง OEM แบบ spark source

1 : Spark Source
2 : Tube furnace
3 : หวัวดัแสงชนดิ photomultiplier tube
4 : ระบบสญุญากาศ

ขอ้ที� 347 :
ขอ้ใด ไม ่ถกูตอ้ง

1 : ขอ้ดขีองการวเิคราะหธ์าตสุว่นผสมในโลหะดว้ยเครื�อง OEM แบบ spark source คอื มคีวาม
เที�ยงตรงและรวดเร็ว
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2 : ความเที�ยงตรงของการวเิคราะหธ์าตสุว่นผสมในโลหะดว้ยเครื�อง OEM แบบ spark source ขึ�น
อยูก่บัการปรับเทยีบโดยใชโ้ลหะมาตรฐาน
3 : เครื�อง OEM แบบ Spark source สามารถวเิคราะหห์าปรมิาณธาตตุา่ง ๆ ในโลหะ ไดตํ้�าถงึ
ระดบั ppm
4 : การวเิคราะหธ์าตสุว่นผสมในโลหะดว้ยเครื�อง OEM แบบ spark source มกีารเตรยีม ตวัอยา่ง
ยุง่ยาก ซบัซอ้น กลา่วคอืตอ้งนํามาขดัใหม้คีวามบางมากๆ (นอ้ยกวา่ 1mm)

ขอ้ที� 348 :
จากภาพที�แสดง จงบอกชื�อของอเิล็กตรอนที�หลดุออกจากอะตอมในภาพ 

1 : โฟโตอเิล็กตรอน (Photoelectron)
2 : ออเจอเิล็กตรอน (Auger electron)
3 : แบคสแกตเตอรงิ อเิล็กตรอน (Back scattering electron)
4 : อเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(Secondary electron)

ขอ้ที� 349 :
จากภาพที�แสดง จงบอกชื�อของอเิล็กตรอนที�หลดุออกจากอะตอมในภาพ 

1 : โฟโตอเิล็กตรอน (Photoelectron)
2 : ออเจอเิล็กตรอน (Auger electron)
3 : แบคสแกตเตอริ�งอเิล็กตรอน (Back scattering electron)
4 : อเิล็กตรอนทตุยิภมู ิ(Secondary eletron)

ขอ้ที� 350 :
พลงังานจลนท์ี�ตรวจสอบไดจ้ากโฟโตอเิล็กตรอน(Photoelectron, Ek) มคีวามสมัพันธก์บัพลงังาน
พันธะ(Binding Energy, Eb)ของอะตอมอยา่งไร

1 : พลงังานพันธะ เทา่กบั พลงังานของโฟตอนลบดว้ยพลงังานจลนท์ี�ไดจ้ากโฟโตอเิล็กตรอน
2 : พลงังานพันธะ เทา่กบั พลงังานของโฟตอนบวกดว้ยพลงังานจลนท์ี�ไดจ้ากโฟโตอเิล็กตรอน
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3 : พลงังานพันธะคณูสอง เทา่กบั พลงังานของโฟตอนลบดว้ยพลงังานจลนท์ี�ไดจ้ากโฟโต
อเิล็กตรอน
4 : ไมม่คีวามเกี�ยวขอ้งกนั

ขอ้ที� 351 :
เมื�อวเิคราะห ์CrN และ Cr2N จะพบวา่พลงังานพันธะ(binding energy)ของโครเมยีมและไนโตรเจนมี
คา่เทา่กนัหรอืไม่

1 : คา่ที�วดัไดไ้มแ่น่นอน ขึ�นอยกูบัวธิทีี�ใชใ้นการตรวจสอบ
2 : เทา่กนั
3 : คา่ไมเ่ทา่กนั เนื�องจากพลงังานพันธะของอเิล็กตรอนในแตล่ะสารประกอบมคีา่ไมเ่ทา่กนั
4 : คา่พลงังานพันธะของโครเมยีมไมเ่ทา่กนั แตค่า่พลงังานพันธะของไนโตรเจนมคีา่เทา่กนั
เนื�องจากเป็นธาตเุบา

ขอ้ที� 352 :
ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกี�ยวกบัพลงังานของออเจอเิล็กตรอน (Auger electron)

1 : พลงังานที�ไดจ้ากอเิล็กตรอนที�หลดุออกจากชั�นพลงังานที�แตกตา่งกนัมคีา่ไมเ่ทา่กนั
2 : พลงังานที�ไดจ้ากอเิล็กตรอนที�หลดุออกจากธาตตุา่งชนดิกนั จะมคีา่ไมเ่ทา่กนั
3 : พลงังานของออเจอเิล็กตรอนที�หลดุออกจากอะตอมจากชั�นพลงังานใดๆจะมคีา่คงที�เสมอ
4 : คา่พลงังานของออเจอเิล็กตรอนของอะตอมใดๆไมข่ึ�นกบัสภาวะแวดลอ้ม เชน่ พันธะทางเคมี

ขอ้ที� 353 :
การตรวจสอบ วเิคราะหส์ารโดยใช ้AES (Auger Electron Spectroscope) สามารถตรวจสอบ
สารประกอบไดห้รอืไม่

1 : ได ้โดยการพจิารณาการเลื�อนของพคี N(E)
2 : ไดโ้ดยการตรวจสอบคา่พลงังานของรังสเีอกซ์
3 : ไดโ้ดยการตรวจสอบพลงังานของโฟโตอเิล็กตรอน
4 : ไมไ่ด ้

ขอ้ที� 354 :
ขอ้ใดตอ่ไปนี�กลา่วไมถ่กูตอ้งเกี�ยวกบัการตรวจสอบเชงิปรมิาณดว้ย AES (Auger Electron
Spectroscope)

1 : การตรวจสอบเชงิปรมิาณดว้ยAES ไมส่ามารถทําได ้
2 : การตรวจสอบเชงิปรมิาณดว้ยAES สามารถทําไดด้ว้ยการตรวจสอบพื�นที�ใตก้ราฟของพคีที�ได ้
จากกราฟแสดงความสมัพันธร์ะหวา่ง N(E)กบั ความเขม้ (Intensity)
3 : การตรวจสอบเชงิปรมิาณดว้ยAES สามารถทําไดด้ว้ยการตรวจสอบคา่สงูสดุและตํ�าสดุของ
พคี(peak to peak height) ของ dN(E)/dEที�ไดจ้ากกราฟแสดงความสมัพันธก์บัคา่ความเขม้
4 : การตรวจสอบเชงิปรมิาณสามารถทําไดท้ั�งสารประกอบและธาตุ

ขอ้ที� 355 :
การตรวจสอบเชงิปรมิาณดว้ยวธิ ีX-ray Photoelectron Spectrometry สามารถทําไดห้รอืไม ่อยา่งไร
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1 : ไมส่ามารถตรวจสอบได ้
2 : สามารถตรวจสอบได ้แตจ่ะไดค้า่ปรมิาณของธาตทุี�มอียูโ่ดยไมส่ามารถแยกแยะธาตแุละ
สารประกอบออกจากกนัได ้
3 : สามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะธาตเุทา่นั�น
4 : สามารถตรวจสอบได ้แยกแยะปรมิาณของสารที�มวีา่อยูใ่นรปูธาตแุละสารประกอบออกจากกนั
ได ้

ขอ้ที� 356 :
ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกี�ยวกบัรังสเีอกซแ์ละรังสแีกมมา

1 : รังสเีอกซม์คีวามสามารถในการทะลทุลวงสงูกวา่รังสแีกมมา จงึมกันํามาใชใ้นการตรวจสอบ
วสัดุ
2 : รังสเีอกซม์คีวามสามารถในการทะลทุลวงนอ้ยกวา่รังสแีกมมา แตส่ามารถควบคมุการเกดิขึ�นได ้
จงึนํามาใชง้านตรวจสอบวสัดุ
3 : รังสเีอกซส์ามารถนํามาใชง้านในการตรวจสอบดว้ยการถา่ยภาพได ้แตรั่งสแีกมมาไมส่ามารถ
นํามาใชไ้ด ้
4 : รังสเีอกซแ์ละรังสแีกมมาเป็นรังสชีนดิเดยีวกนั

ขอ้ที� 357 :
ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกี�ยวกบัรังสทีี�ใชใ้นการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีX-ray diffraction

1 : ใชรั้งสเีอกซท์ี�มคีา่ความยาวคลื�นหลายคา่ (continuous X-ray)
2 : ใชรั้งสเีอกซท์ี�มคีา่ความยาวคลื�นเพยีงคา่เดยีว (characteristic X-ray)
3 : ใชรั้งสเีอกซท์ี�มคีา่ความยาวคลื�นหลายคา่ (continuous X-ray) และคา่ความยาวคลื�นเพยีงคา่
เดยีว (characteristic X-ray)
4 : ใชรั้งสเีอกซแ์ละรังสแีกมมาที�มคีา่ความยาวคลื�นเพยีงคา่เดยีว (characteristic X-ray)

ขอ้ที� 358 :
เมื�ออเิล็กตรอนเปลี�ยนชั�นพลงังานจาก L มาเป็น K จะทําใหเ้กดิ

1 : รังสแีกมมา K alpha
2 : รังสแีกมมา K beta
3 : รังสเีอกซ ์K alpha
4 : รังสเีอกซ ์K beta

ขอ้ที� 359 :
การตรวจสอบวสัดดุว้ยวธิ ีX-ray diffraction ตอ้งเตรยีมชิ�นงานอยา่งไร

1 : เตรยีมเป็นผงเทา่นั�น
2 : เตรยีมเป็นชิ�นเทา่นั�น
3 : เตรยีมอยูใ่นรปูสารละลาย
4 : เตรยีมอยูใ่นรปูแบบผงหรอืชิ�นงานกไ็ด ้

ขอ้ที� 360 :
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การตรวจสอบดว้ยวธิ ีX-ray Diffraction สามารถแยกแยะวสัดทุี�ตา่งชนดิกนัออกจากกนัไดโ้ดยอาศยั
สมบตัขิอ้ใดของวสัดุ

1 : ระยะหา่งระหวา่งระนาบในโครงสรา้งผลกึที�แตกตา่งกนั
2 : ความแตกตา่งของความสามารถในการดดูซบํรังสเีอกซท์ี�ในแตล่ะวสัดุ
3 : ความแตกตา่งของความสามารถในการสะทอ้นของระสเีอกซใ์นแตล่ะวสัดุ
4 : ความแตกตา่งของพลงังานของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (Characteristic X-ray) ในวสัดแุตล่ะชนดิ

ขอ้ที� 361 :
การตรวจสอบดว้ย Energy Dispersive Spectrometer และ Wavelength Dispersive
Spectrometer วา่มธีาตอุะไรบา้ง ทําไดโ้ดยอาศํย

1 : ระยะหา่งระหวา่งระนาบในโครงสรา้งผลกึที�แตกตา่งกนั
2 : ความแตกตา่งของความสามารถในการดดูซบัรังสเีอกซท์ี�ในแตล่ะวสัดุ
3 : ความแตกตา่งของความสามารถในการสะทอ้นของระสเีอกซใ์นแตล่ะวสัดุ
4 : ความแตกตา่งของพลงังานของรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (Characteristic X-ray) ในวสัดแุตล่ะชนดิ

ขอ้ที� 362 :
หากตอ้งการตรวจสอบปรมิาณโครเมยีมที�ละลายอยูใ่นเหล็ก และปรมิาณโครเมยีมที�ตกตะกอนเป็น
เฟสที�สองในเหล็กชิ�นงานเดยีวกนั ควรใชว้ธิใีด จงึจะสามารถแยกแยะโครเมยีมทั�งสองอยา่งออกจาก
กนัได ้

1 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น(Transmission Electron Microscope)
2 : Spark Emission Spectrometer
3 : X-ray Photoelectron Spectrometer
4 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)

ขอ้ที� 363 :
หากตอ้งการตรวจสอบปรมิาณของความผดิปกตใินผลกึ(Dislocation)จะใชว้ธิใีด

1 : กลอ้งจลุทรรศนแ์สง
2 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด(Scanning Electron Microscope)
3 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope)
4 : ตรวจสอบดว้ยภาพถา่ยจากรังสเีอกซ์

ขอ้ที� 364 :
การตรวจสอบความผดิปกตใินผลกึ (dislocation) โดยการถา่ยภาพ จะสามารถมองเห็นความผดิปกติ
ในผลกึไดโ้ดยอาศยั

1 : ความแตกตา่งที�เกดิจากเฟส (phase contrast)
2 : ความแตกตา่งที�เกดิจากความหนา (thickness contrast)
3 : ความแตกตา่งที�เกดิจากการเลี�ยวเบน (diffraction contrast)
4 : ความแตกตา่งจากรังสเีอกซ ์(X-ray contrast)

ขอ้ที� 365 :
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วธิใีดบา้งที�ใชใ้นการตรวจสอบโครงสรา้งผลกึได ้
1 : พลงังานของรังสเีอกซใ์น Energy Dispersive Spectrometer
2 : พลงังานของรังสเีอกซใ์น Wavelength Dispersive Spectrometer
3 : ผลที�วดัไดจ้ากเครื�อง X-ray Fluoresence
4 : Electron Diffraction Pattern จากกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกวาด (Transmission
Electron Microscope)

ขอ้ที� 366 :
การหกัเหของอเิล็กตรอนที�ทะลผุา่นเนื�อวสัดมุปีระโยชนอ์ยา่งไร

1 : สามารถเพิ�มการทะลทุลวงในเนื�อวสัดุ
2 : ชว่ยลดอณุหภมูขิองวสัดขุณะตรวจสอบ
3 : ชว่ยใหท้ราบถงึโครงสรา้งผลกึของวสัดุ
4 : ชว่ยลดพลงังานในการใชเ้รง่อเิล็กตรอน

ขอ้ที� 367 :
ความดนัในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron) ควรเป็นอยา่งไร
เพราะอะไร

1 : ความดนัตํ�า เพื�อเพิ�มปรมิาณของอเิล็กตรอนที�ชนกบัชิ�นงาน
2 : ความดนัตํ�า เพื�อลดการกระเจงิของอเิล็กตรอนที�เกดิจากการชนของอเิล็กตรอนกบัอะตอมของ
กา๊ซ
3 : ความดนัสงู เพื�อเพิ�มความเขม้ของรังสเีอกซจ์ะใชใ้นการวเิคราะห์
4 : ความดนัปกต ิเพื�อความสะดวกในการทํางาน

ขอ้ที� 368 :
การตรวจสอบโครงสรา้งเพื�อยนืยนัชนดิของเฟสที�สองขนาดเล็กระดบันาโนเมตรที�ตกผลกึในเนื�อวสัดุ
ควรใชเ้ทคนคิใดในการตรวจสอบ

1 : X-ray Photoelectron Spectrometer
2 : ภาพถา่ยจากกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)
3 : Electron Diffraction pattern จากชิ�นงานที�ทําดว้ยเทคนคิ replicaจากกลอ้งจลุทรรศน์
อเิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น(Transmission Electron Microscope)
4 : X-ray Fluoresence

ขอ้ที� 369 :
Kikuchi pattern สามารถสรา้งไดจ้ากเครื�องมอืวเิคราะหใ์ด

1 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope)
2 : กลอ้งจลุทรรศนแ์สง
3 : X-ray Diffractrometer
4 : X-ray Photoelectron spectrometer

ขอ้ที� 370 :



5/3/2021 สภาวศิวกร

203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=71&aDb=0 80/87

สภ
าว

ศิว
กร

 ข
อ

ขอ
สง

วน
สทิ

ธิ�

Kikuchi Pattern สามารถใหข้อ้มลูใดไดบ้า้ง
1 : โครงสรา้งมหภาค
2 : โครงสรา้งจลุภาค
3 : โครงสรา้งผลกึ
4 : ขนาดเกรน

ขอ้ที� 371 :
ขอ้มลูใดตอ่ไปนี�สามารถบอกไดจ้าก Electron Channeling Pattern

1 : โครงสรา้งจลุภาค
2 : โครงสรา้งมหภาค
3 : โครงสรา้งผลกึ
4 : ขนาดของผลกึ

ขอ้ที� 372 :
ในการตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron
Microscope) ที� Back Focal Plane จะเกดิภาพอะไร และใหข้อ้มลูอะไร

1 : ไดภ้าพถา่ยแบบ dark field image โดยจะแสดงถงึโครงสรา้งจลุภาค
2 : ไดภ้าพถา่ยแบบ bright field image โดยจะแสดงถงึโครงสรา้งจลุภาค
3 : ไดภ้าพของ electron diffraction pattern แสดงถงึโครงสรา้งผลกึและชนดิของวสัดุ
4 : ไดภ้าพถา่ยที�แสดงถงึปรมิาณของสว่นผสมที�บรเิวณตา่งๆ

ขอ้ที� 373 :
ภาพถา่ยแบบใดไดจ้ากลําอเิล็กตรอนที�หกัเหในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่ง
ผา่น(Transmission Electron Microscope)

1 : electron diffraction pattern
2 : bright field image
3 : dark field image
4 : back focal image

ขอ้ที� 374 :
electron diffraction pattern ของชิ�นงานที�มผีลกึเดยีวจะมลีกัษณะอยา่งไร

1 : เป็นเสน้รปูรา่งสี�เหลี�ยม
2 : เป็นเสน้วงกลม
3 : เป็นจดุหลายจดุกระจายอยา่งมแีบบแผน
4 : เป็นเสน้รปูรา่งหกเหลี�ยม

ขอ้ที� 375 :
เมื�อตรวจสอบดว้ย Energy Dispersive Spectrometer (EDS) จะมคีวามลกึจากผวิที�ตรวจสอบลงไป
ในเนื�อชิ�นงานประมาณเทา่ไร

1 : 1-2 นาโนเมตร
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2 : 10-15 นาโนเมตร
3 : 1-2 ไมโครเมตร
4 : 1-2 มลิลเิมตร

ขอ้ที� 376 :
ในการตรวจสอบดว้ยวธิใีดสามารถใหภ้าพที�แสดงรายละเอยีดระดบัอะตอมได ้โดยแสดง lattice
image

1 : กลอ้งจลุทรรศนแ์สง
2 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope)
3 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope)
4 : กลอ้งจลุทรรศนท์กุแบบ

ขอ้ที� 377 :
ขอ้ใดไมใ่ชเ่หตผุลที�เลอืกใชรั้งสเีอกซ ์K alpha ในการตรวจสอบดว้ยเทคนคิ X-ray Diffraction

1 : รังสเีอกซ ์K alpha มคีวามเขม้มากกวา่ รังสเีอกซ ์K beta
2 : สามารถกรองรังสเีอกซ ์K beta ได ้
3 : รังสเีอกซ ์K alpha มคีวามแตกตา่งของความยาวคลื�นนอ้ยกวา่ รังสเีอกซ ์K beta
4 : พลงังานที�ใชใ้นการเกดิรังสเีอกซ ์K alpha ตํ�ากวา่

ขอ้ที� 378 :
ขอ้ใดไมช่ว่ยใหเ้กดิความแตกตา่งของความความดําในภาพถา่ย(contrast) ที�ไดจ้ากกลอ้งจลุทรรศน์
อเิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น

1 : มมุของการเลี�ยวเบนของอเิล็กตรอน
2 : สขีองวสัดุ
3 : ชนดิของอะตอมในชิ�นงาน
4 : ความหนาของชิ�นงาน

ขอ้ที� 379 :
เมื�อใชรั้งสเีอกซช์นดิ Cu K-alpha ที�มคีวามยาวคลื�น 1.54 องัสตรอมตรวจสอบชิ�นงานดว้ยเทคนคิ
XRD จะสามารถตรวจสอบวสัดทุี�มรีะยะระหวา่งเพลน (interplanar spacing ) ตํ�าที�สดุไดเ้ทา่ไร

1 : 0.30
2 : 0.51
3 : 0.77
4 : 1.54

ขอ้ที� 380 :
การลด working distance ในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) จะทําให ้

1 : ลําอเิล็กตรอนมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลง
2 : ความยาวคลื�นของอเิล็กตรอนลดลง
3 : ความตา่งศกัยท์ี�ใชใ้นการเรง่อเิล็กตรอนลดลง
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4 : ไมเ่กดิการเปลี�ยนแปลงใดๆ

ขอ้ที� 381 :
ระนาบใดที�จะไมป่รากฏ electron diffraction pattern ของอะลมูเินยีมที�มโีครงสรา้งแบบ เฟซ
เซนเตอร ์ควิบกิ (FCC)

1 : 100
2 : 111
3 : 200
4 : 311

ขอ้ที� 382 :
ระนาบใดที�ปรากฏ electron diffraction pattern ของอะลมูเินยีมที�มโีครงสรา้งแบบ บอดเีซนเตอร์
ควิบกิ (BCC)

1 : 100
2 : 111
3 : 200
4 : 210

ขอ้ที� 383 :
ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกี�ยวกบั resolution ของกลอ้งจลุทรรศน์

1 : Resolution ของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) ดกีวา่กลอ้งจลุทรรศนแ์สง
(OM) เนื�องจากแสงมคีวามยาวคลื�นสั�นกวา่อเิล็กตรอน
2 : Resolution ของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) เมื�อถา่ยภาพโดยอาศยัความ
แตกตา่งของสว่นผสม (composition contrast) จะสญูเสยีไปถา้ตรวจสอบวสัดทุี�มเีลขอะตอมใกล ้
เคยีงกนั
3 : Resolution ของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) จะดขีึ�นเมื�อขยายลําอเิล็คตรอน
ใหม้ขีนาดใหญ่
4 : Resolution ของกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) จะดทีี�สดุเมื�อมคีวามยาวคลื�น
ใกลเ้คยีงกบัความยาวคลื�นแสง

ขอ้ที� 384 :
ในวสัดทุี�มเีกรนเล็กขนาดนาโน เมื�อตรวจสอบดว้ย การเลี�ยวเบนของรังสเีอ็กซ ์(X-ray diffraction)
ผลที�ไดจ้ะแตกตา่งจากวสัดทุี�มเีกรนขนาดใหญอ่ยา่งไร

1 : มคีา่ความเขม้ของรังสเีอ็กซท์ี�ตรวจสอบไดส้งูกวา่มาก
2 : มคีา่ความกวา้งของยอดกราฟ(peak)ที�ครึ�งหนึ�งของความสงู (full width half max, FWHM)
มาก
3 : มกีารเลื�อนตําแหน่งของยอดกราฟ (peak) ที�ตรวจสอบได ้
4 : ไมม่ลีกัษณะที�แตกตา่งกนั

ขอ้ที� 385 :
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การวเิคราะหผ์ลจากกราฟที�ตรวจสอบวสัดดุว้ยวธิกีารเลี�ยวเบนของรังสเีอ็กซ ์(X-ray diffraction) จะ
ไมส่ามารถใหข้อ้มลูในเรื�องใดได ้

1 : ปรมิาณของตวัถกูละลายในสารละลายของแข็ง
2 : ขนาดของผลกึ
3 : ชนดิของวสัดทุี�มโีครงสรา้ง
4 : ชนดิของวสัดอุสณัฐาน (amorphous)

ขอ้ที� 386 :
ขอ้ใดสามารถบง่บอกถงึ electron diffraction pattern ของวสัดไุด ้

1 : ผลกึสว่นกลบั (reciprocal lattice)
2 : อวีาลดส์เฟีย (Ewald sphere)
3 : อวีาลดส์เฟีย (Ewald sphere)และผลกึสว่นกลบั (reciprocal lattice)
4 : ขนาดของอะตอม

ขอ้ที� 387 :
เมื�อตอ้งการตรวจสอบความตอ่เนื�องของอะตอมในผลกึควรเลอืกใชเ้ครื�องมอืใดตอ่ไปนี� เพราะเหตผุล
ใด

1 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (SEM) เพราะมกํีาลงัขยายสงู
2 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (TEM) เพราะสามารถถา่ยภาพที�ม ีresolution สงู
มากได ้
3 : เครื�องตรวจสอบการเลี�ยวเบนของรังสเีอ็กซ ์(X-ray diffractometer) เพราะบอกโครงสรา้ง
ผลกึได ้
4 : การถา่ยภาพดว้ยรังสเีอกซ์

ขอ้ที� 388 :
การเพิ�มความตา่งศกัยใ์นการเรง่อเิล็กตรอนในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนทําใหเ้กดิผลหลายอยา่ง
ยกเวน้

1 : เพิ�มขนาดของอนัตรกรยิา(interaction volume)
2 : ลดความยาวคลื�นของอเิล็กตรอน
3 : เพิ�ม resolution
4 : เพิ�มจํานวนอเิล็กตรอน

ขอ้ที� 389 :
การตรวจสอบโดยใชโ้ฟโตอเิล็กตรอน (X-ray Photoelectron Spectrometry,XPS)แตกตา่งการตรวจ
สอบดว้ย (Auger Electron Spectrocopy,AES) ในเรื�องใด

1 : การตรวจสอบผวิบางของชิ�นงาน
2 : พลงังานของอเิล็กตรอนที�ใชใ้นการตรวจสอบธาตแุละสารประกอบจะแตกตา่งกนัตามชนดิของ
อเิล็กตรอน
3 : ภาพถา่ยที�ไดจ้ากการตรวจสอบแตกตา่งกนั
4 : ชิ�นงานจะถกูทําลายเมื�อตรวจสอบโดยใชโ้ฟโตอเิล็กตรอน (XPS)แตไ่มถ่กูทําลายเมื�อตรวจ
สอบดว้ย (AES)
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ขอ้ที� 390 :
ภาพ electron diffraction pattern นี�แสดงถงึโครงสรา้งผลกึของวสัดวุา่  

1 : เป็นวสัดผุลกึเดี�ยวที�มโีครงสรา้งผลกึแบบ FCC
2 : เป็นวสัดหุลายผลกึที�มโีครงสรา้งผลกึแบบ FCC
3 : เป็นวสัดทุี�ไมม่โีครงผลกึ
4 : ไมส่ามารถบอกโครงสรา้งผลกึของวสัดไุดจ้าก electron diffraction pattern

ขอ้ที� 391 :
ภาพ electron diffraction pattern ตอ่ไปนี�แสดงขอ้มลูใดของวสัด ุ

1 : เป็นวสัดผุลกึเดี�ยว
2 : เป็นวสัดหุลายผลกึ
3 : เป็นวสัดแุบบอสณัฐาน หรอื อะมอฟัส
4 : ไมส่ามารถแสดงขอ้มลูใดได ้

ขอ้ที� 392 :
วสัดทุี�เป็นผลกึเดี�ยวจะม ีelectron diffraction pattern แบบใด
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1 : 

2 : 

3 : 
4 : ไมม่รีปูแบบของ electron diffraction pattern ที�แน่นอน

ขอ้ที� 393 :
เมื�อเพิ�มความตา่งศกัยใ์นการเรง่อเิล็กตรอน (accelerated voltage) ในกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนจะ
ทําใหเ้กดิสิ�งใดขึ�น

1 : ความยาวคลื�นของลําอเิล็กตรอนยาวขึ�น
2 : ขนาดของอนัตรกรยิาเพิ�มขึ�น
3 : ขนาดของลําอเิล็กตรอนใหญข่ึ�น
4 : ไมเ่กดิอะไรขึ�น
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ขอ้ที� 394 :
ในการตรวจสอบวสัดดุว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอน เลขอะตอมของวสัดเุพิ�มขึ�นจะมผีลตอ่ขนาดของ
อนัตรกรยิา(interaction volume) อยา่งไร

1 : ขนาดของอนัตรกรยิา(interaction volume) เล็กลง
2 : ขนาดของอนัตรกรยิา(interaction volume) ใหญข่ึ�น
3 : ขนาดของอนัตรกรยิา(interaction volume) เทา่เดมิ
4 : ไมส่ามารถบอกไดเ้นื�องจากไมม่คีวามสมัพันธร์ะหวา่ง ขนาดของอนัตรกรยิา(interaction
volume) กบัเลขอะตอมของวสัดุ

ขอ้ที� 395 :
การสรา้ง Kikuchi pattern สามารถทําไดโ้ดยใชเ้ครื�องมอืใด

1 : กลอ้งจลุทรรศนแ์สง
2 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบกวาด (Scanning Electron Microscope,SEM)
3 : กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission Electron Microscope,TEM)
4 : เครื�องตรวจสอบการเลี�ยวเบนของรังสเีอกซ ์(X-ray Diffractometer)

ขอ้ที� 396 :
Kikuchi pattern สามารถบอกขอ้มลูใดไดห้ลายอยา่ง ยกเวน้

1 : ขนาดของโครงผลกึ
2 : ชนดิของโครงผลกึ
3 : ชนดิของวสัดทุี�มโีครงสรา้ง
4 : ชนดิของวสัดอุสณัฐาน

ขอ้ที� 397 :
การตรวจสอบฟิลม์บางระดบันาโนเมตรบนผวิชิ�นงานควรเลอืกใชท้คนคิใด

1 : การตรวจสอบพลงังานของออเจอเิล็กตรอน
2 : การตรวจสอบพลงังานของโฟโตอเิล็กตรอน
3 : การตรวจสอบพลงังานของออเจอเิล็กตรอนและโฟโตอเิล็กตรอน
4 : การตรวจสอบพลงังานของรังสเีอกซแ์บบเฉพาะตวั (characteristic x-ray)

ขอ้ที� 398 :
ในการตรวจสอบธาตใุนวสัดดุว้ยรังสเีอกซเ์ฉพาะตวั (characteristic x-ray) โดยตรวจสอบจาก
ความยาวคลื�น (Wavelength Dispersive Spectrometry,WDS) และพลงังาน (Energy Dispersive
Spectrometry,EDS) จะมขีอ้แตกตา่งกนัอยา่งไร

1 : ขนาดของอนัตรกรยิาของการตรวจสอบจากความยาวคลื�น (Wavelength Dispersive
Spectrometry,WDS)เล็กกวา่ทําใหต้รวจสอบไดแ้มน่กวา่
2 : ขนาดของอนัตรกรยิาของการตรวจสอบจากพลงังาน (Energy Dispersive
Spectrometry,EDS)เล็กกวา่ทําใหต้รวจสอบไดแ้มน่กวา่
3 : ชว่งของพลงังานที�ตรวจสอบไดเ้ป็นชว่งกวา้งมากกวา่ชว่งของความยาวคลื�นที�ตรวจสอบไดจ้าก
ธาตใุดๆทําใหก้ารตรวจสอบดว้ย พลงังาน (Energy Dispersive Spectrometry,EDS) มคีวาม
แมน่ยํานอ้ยกวา่
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ใดๆทําใหก้ารตรวจสอบดว้ย พลงังาน (Energy Dispersive Spectrometry,EDS) มคีวามแมน่ยํา
มากกวา่

ขอ้ที� 399 :
ขอ้ใดเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของการตรวจสอบธาตจุากรังสเีอกซแ์บบเฉพาะตวั (Characteristic x-ray)โดย
ใชพ้ลงังานของรังสเีอกซ ์(Energy Dispersive Spectrometry,EDS)

1 : ตรวจสอบไดแ้มน่ยํากวา่การใชค้วามยาวคลื�น (Wavelength Dispersive
Spectrometry,WDS)
2 : ตรวจสอบไดเ้ร็วกวา่การใชค้วามยาวคลื�น (Wavelength Dispersive Spectrometry,WDS)
3 : ตรวจสอบไดจํ้านวนธาตหุลากหลายกวา่การใชค้วามยาวคลื�น (Wavelength Dispersive
Spectrometry,WDS)
4 : ไมม่ขีอ้แตกตา่ง

ขอ้ที� 400 :
เทคนคิ ZAF ใน Energy Dispersive Spectrometer (EDS) ใชเ้พื�ออะไร

1 : คํานวณหาปรมิาณสารประกอบในวสัดุ
2 : คํานวณหาปรมิาณธาตใุนวสัดุ
3 : คํานวนหาสดัสว่นโดยปรมิาตรของแตล่ะเฟสในวสัดุ
4 : คํานวนหาสดัสว่นโดยพื�นที�ของแตล่ะเฟสในวสัดุ

สภาวศิวกร 487/1 ซอย รามคําแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
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